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Technologie v oblasti polovodicd, plochych displejd (FPD) a elektronickych zafizeni se rychle vyvijeji.
Vzhledem k tomu, Ze poZadavky primyslu jsou stéle specializovanéjsi a rozmanitéjsi, musi s nimi
drzet krok i moznosti vyzkumnych a kontrolnich pfistroj(.

Nase mikroskopické systémy jsou konstruovany tak, aby dostaly neustale se ménicim narokdim
aplikaci v oblasti vyzkumu a kontrol. Jiz pFes 100 let vyvijime pokrocilé optické a presné technologie,
které nam umoziuji vytvaret univerzalni systémy se Sirokou Skalou Spickového pfislusenstvi, jako
je napriklad nas prosluly opticky systém UIS2 s korekci na nekonecno.
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3D méfici laserovy mikroskop

MéFici laserovy mikroskop OLS5100 3D

Laserovy 3D mikroskop LEXT™ OLS5100 slouzi k pfesnému méreni tvaru a drsnosti povrchu na

submikronové urovni.

Zvyste si produktivitu diky inteligentnimu pracovnimu postupu:

> Celkové zvétSeni: 54x-17280x

> Sbér presnych dat 3D méreni jedinym kliknutim
> AZ o 30 % rychlejsi méreni diky Inteligentnimu spravci experimentl.*

*Ve srovndni s pfedchozim modelem.

oLYMPUS

Technické parametry OLS5100

LASER RADIATION

(IEC60825-1:2014)
(EN60825-1:2014/A11:2021)
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Model OLS5100-SAF OLS5100-SMF ‘ OLS5100-LAF OLS5100-EAF
Celkové zvétSeni 54x-17280x
Zorné pole 16 pm-5120 ym

Princip méreni

Opticky systém

Konfokalni laserovy skenovaci mikroskop s odrazenym svétlem, barevny
Konfokalni laserovy skenovaci DIC mikroskop s odrazenym svétlem, barevny DIC

Svétlo prijimajici prvek

Laser: Fotondasobi¢ (2 kanaly), barevny: Barevna CMOS kamera

Méreni vysky Dynamicky rozsah 16 bitd
Opakovatelnost 10n1**2* 10x: 0,1 ym, 20x: 0,03 ym, 50x: 0,012 pm, 100x: 0,012 ym
Presnost*1*3* 0,15+L/100 pum (L: Délka méreni [pm])
Presnost seSivaného snimku *1*3** 10x: 5,0+L/100 pm, 20x nebo vyssi: 1,0+L/100 um (L: Délka seSivani [um])
Sum méFeni (3um Sq) *1**5 1 nm [typ]

Méreni Sirky Opakovatelnost 301 "™ 10x: 0,2 ym, 20x: 0,05 pm, 50x: 0,04 ym, 100x: 0,02 ym

Presnost**3*s

Mérend hodnota +1,5 %

Presnost spojovaného snimku *1*3*s

10x: 24+0,5L pm, 20x: 15+0,5L pm, 50x: 9+0,5L ym, 100x: 7+0,5L um (L: Délka spojeni [mm])

Konfigurace stolku XY Pracovni rozsah 100 x 100 mm 100 x 100 mm 300 x 300 mm 100 x 100 mm
motorizovany posuv rucni posuv motorizovany posuv motorizovany posuv
Maximalni vySka vzorku 100 mm 40 mm 37 mm 210 mm

Laserovy svételny zdroj | Vinova délka

405 nm

Barevny svételny zdroj

Bilé LED svétlo

Hmotnost Télo mikroskopu

cca3lkg(683lb) |  cca32kg(705lb) | ccaS0kg(11021b) | ccad3kg(94:8Ib)

Ridici jednotka

cca 12 kg (26,5 Ib)

*1 Garantovdno pii pouZiti v prostredi s konstantni teplotou a vihkosti (teplota: 20 °C +1 °C, vihkost: 50 % + 1 %) podle normy ISO 554 (1976), JIS Z-8703 (1983).
*2 Pro zvétseni 20x nebo vétsi pfi méreni s pouZitim objektivu fady MPLAPON LEXT. *3 Pri méreni specidlnim objektivem LEXT.
*4 Typickd hodnota pri méreni objektivy MPLAPONTOO0XLEXT se nemusi shodovat s garantovanou hodnotou. *5 Garantovdno v ramci certifikacniho systému Evident.

Specifikace objektivu
Rada Model Numerickd apertura (NA) Pracovni vzdalenost (W.D.) (mm)
Cotka objektivu UIS2 MPLFLN5X 0,15 20,0
Dedikovany objektiv LEXT (10x) MPLFLN10XLEXT 0,3 104
Dedikovany objektiv LEXT MPLAPON20XLEXT 0,6 1,0
(vysoce vykonny typ) MPLAPONSOXLEXT 095 035
MPLAPON100XLEXT 0,95 0,35
Dedikovany objektiv LEXT LMPLFLN20XLEXT 0,45 6,5
(typ pro velkou pracovni vzdalenost) LMPLELN50XLEXT 0,6 5,0
LMPLFLN100XLEXT 0,8 34




DSX1000

Digitalni mikroskop

Digitalni mikroskop DSX1000 spojuje Spickovou makro- a mikro-optiku v jediném systému. Diky 23x aZ 8220x
zvétseni jej Ize pouzit ke kontrole a pripravé vzorkl (pfi malém zvétSeni) i k podrobné analyze mikrostruktury
(pfi velkém zvétSeni).

> Rozsahly vybér objektivli umoznujici nalezeni
nejvhodnéjSiho nastaveni zvétSeni, rozliSeni
a pracovni vzdalenosti pro konkrétni vzorek

> Obraz vzorku z vice smér(i s kédovanym
pozorovacim systémem s volnym Uhlem

> Vicendsobné pozorovani jedinym kliknutim

Technické parametry DSX1000

Model DSX10-SZH (systém se vzpfimenym ramem) ‘ DSX10-UZH (systém s naklapécim rdmem)
Opticky Opticky systém Telecentricky opticky systém
systém Metoda zvétSeni, pomér pfibliZeni 10x / motoricky pohon
Kalibrace Automaticka
Zdvih ve sméru osy Z 50 mm (rucni)
Pozorovani s ndklonem se Sikmym zobrazenim Neni k dispozici +90°/grafické uZivatelské rozhrani
Objektivovy nastavec Rychle prepinatelné, kédované objektivové nastavce automaticky aktualizuji informace o zvétSeni a zorném poli
Maximalni celkové zvétsen{
(na 27palcovém monitoru) 8220x
Pracovni vzdalenost (W.D.) 66,1 mm-0,35 mm
Presnost a opakovatelnost (v roviné X-Y)" Presnost zvétseni: 3 %
Opakovatelnost (ve sméru osy Z)"2 Opakovatelnost (vyska): on1 < 1 pm
Kamera Obrazovy snimac CMOS 1/1,2 palce; 2,35 mil. barevnych pixel(
Chlazeni Chlazeni Peltierovym ¢ldnkem
Snimkova frekvence 60 fps (maximalni hodnota)
NormdlIni 1200 x 1200 (1:1)/1600 x 1200 (4:3)
Jemny Neni k dispozici 1200 x 1200 (1:1)/1600 x 1200 (4:3)
Velmi jemny Neni k dispozici ‘ 3600 x 3600 (1:1)/4800 x 3600 (4:3)
Osvétleni Barevny svételny zdroj LED: Zivotnost 60 000 hodin (konstrukéni)
Pozorovani BF (svétlé pole) Standard
0BQ (Sikmé) Standard
DF (tmavé pole) Standard: LED prstenec rozdéleny do ¢tyi segment(
SmiSené (svétlé + tmavé pole) Standard: Soucasné pozorovani svétlého a tmavého pole
PO (polarizace) Standard
DIC (diferencidlni interference) Neni k dispozici Standard
Zvyseni kontrastu Standard
Funkce zvétSeni hloubky ostrosti Neni k dispozici Standard
Osvétleni prochazejicim svétlem Standard*
Ostreni Ostreni Motorizovany pohon: Pojezd 101 mm (motoricky pohon)
Monitor Velikost/rozliSeni Plochy displej o uhlopfitce 23 palcti / 1920 (S) x 1080 (V)
Jgnn?,tﬂ?as\fa, motorizovany stolek, displej a konzole) 437 kg (96,3 b) 467 kg (103 1b)
Spotreba 100 V-120 V/220 V-240V, 1,1/0,54 A, 50/60 Hz

*1 Kalibraci musi provést spolecnost Evident nebo autorizovany servisni technik. Za tcelem zaruceni presnosti v roviné XY je nutnd kalibrace s pouZitim pfislusenstvi DSX-CALS-HR (kalibracniho vzorku). Aby bylo
moZno vydat osvédceni, musi byt kalibrace provedena servisnim technikem spolecnosti Evident. *2 PFi pouZiti objektivu se zvétSenim 20x nebo vyssim. *3 Je nutno pouZit volitelné prislusenstvi DSX10-ILT.

Specifikace objektivu

Model DXS10-SXLOB ‘ DSX10-XLOB ‘ Objektiv UIS2
Objektiv Maximalni vyska vzorku 50 mm ‘ 115 mm ‘ 145 mm
Maximalni vySka vzorku 50 mm
(pozorovani s volnym dhlem)
Celkové zvétSeni (na 27palcovém monitoru) 23x-1644x 49x-6570x ‘ 26x*4-8220x
Opjektlvovy Pocet objektivd, které je mozné pripojit Nejvyse 1 kus (ngstalveqe integrovan Nejuyge 2 kusy
nastavec s objektivem)
*4 Celkové (maximdini) zvétseni pri pouZiti pfislusenstvi MPLFLN1.25X
Technické parametry stolku
Model DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Stolek i:glr?jéﬁ; s motorickym pohonem / Motorizovany pohon (s funkci rotace) Motorizovany pohon Ru¢ni
Pojezd XY Prioritni reZim pojezdu: 100 mm x 100 mm
ReZim priority rotace: 50 mm x 50 mm 100 mm x 100 mm 100 mm x 105 mm
Uhel rotace Prioritni rezim pojezdu: +20° Neni k dispozici
ReZim priority rotace: +90° P
Uhel otoceni displeje Grafické uZivatelské rozhrani Neni k dispozici
Odolnost proti zatiZzeni 5kg (111b) ‘ 1kg (2,2 1b)




Systém pro kontrolu technick

CIX100

Systém pro kontrolu technick

Cistoty

7 v

é Cistoty

Systém CIX100 pFedstavuje ucelové FeSeni pro technickou Cistotu na Kkli€. Rychlé pofizovani, zpracovani
a dokumentace dat o zbytkovych ¢asticich u vyrobenych dilG podle firemnich a mezinarodnich norem.

> Zpracovani Zivého obrazu
a klasifikace velkych a malych
¢astic (2,5 ym az 42 mm)

> Intuitivni postup a tvorba protokol(
jednim kliknutim pro uzivatele vSech

Urovni zkuSenosti

> Prfedem konfigurovany a kalibrovany
systém s automatickymi kontrolami

Technické parametry CIX100

ourrus

Mikroskop Motorizované ostieni  Koaxialni motorizované jemné ostfeni 3osym joystickem ¢ Rozsah ostfeni 25 mm ¢ Jemny posuv 100 pm / otacka
¢ Maximalni vySka upnuti drzaku na stolku: 40 mm e Rychlost ostfeni 200 pm/s ® Podpora automatického softwarového
zaostrovani
* Nastavitelnd vicebodovd mapa ostreni
Osvétleni  Vestavéné LED osvétleni e Osvétlovaci mechanizmus se soucasnou detekci reflexnich a nereflexnich ¢astic
o Intenzita svétla ovladatelna softwarem
Zobrazovaci zafizeni * Barevna kamera CMOS USB 3.0  Velikost on-chip pixelu 2,2 x 2,2 ym
Velikost vzorku o Standardnim vzorkem je filtratni membrana o prdméru 47 mm. K dispozici jsou i drzaky na filtry s primé&rem membrany
25 mm nebo 55 mm nebo drzaky vzorkd na miru
Hlavice objektiv( Motorizovana hlavice objektivii | ® 6polohova motorizovand hlavice objektivil se 3 pfedem instalovanymi objektivy UIS2 ¢ K nahledu slouzi PLAPON 1,25X
® Objektiv MPLFLN 5X pro detekci ¢astic vétSich neZ 10 um e Objektiv MPLFLN 10X pro detekci ¢astic vétSich nez 2,5 pm
Ovladani softwarem  ZvétSeni obrazu a vztah mezi pixelem a velikosti je zndm v kazdém okamziku.
* Vybrané objektivy se pouZivaji ve vybranych krocich procesu méreni, kde jsou polohovény automaticky.
Stolek Motorizovany stolek X, Y « Rizeni pohybu krokovymi motory e Maximalni rozsah: 130 x 79 mm e Max. rychlost 240 mm/s
(kulickovy Sroub se stoupanim 4 mm) e Opakovatelnost <1 pm e RozliSeni 0,01 pm e Ovladani 3osym joystickem
Ovladani softwarem * Rychlost skenovani zavisi na pouZitém zvétSeni; pfi zvétSeni 10x je doba skenovani kratSi nez 10 minut.
* Vyrovnani stolku se provadi pri montdZi ve vyrobé
Drzék vzorku * Drzék membrany je proveden tak, aby nedochézelo k nezddoucimu otdceni membrany pfi montazi
® Drzédk membranu mechanicky vyrovnava e K montazi krytu neni nutné naradi
e Drzék vzorku pro filtraéni membrany o priméru 25 mm, 47 mm a 55 mm
* Drzak vzorku pro lapace €astic, spotfebni material pro lapace ¢astic a odbér vzorkd lepici paskou
Zafizeni PSD (Particle Standard | ¢ Referencni vzorek pouZity k ovéreni systémového méreni
Device)  Vzorek pouZity v systému kontrol; vestavéna funkce pro kontrolu spravné funkce CIX.
* PSD je vzdy prifazen k pozici 2 na stolku
2polohova vlozka stolku e Vlozka stolku zajistuje spravné umisténi drzaku vzorkd a PSD
Ovladac Pracovni stanice * HP Z4G4, Windows 10 64-bit Professional (English) ¢ 16 GB RAM, 256 GB SSD a datové uloZisté 4 TB
* 2GB grafické karta  Instalace Microsoft Office 2019 (English)
o Sitové pripojeni, anglicka klavesnice QWERTY, optickd mys$ 1000 dpi
Pridavné obvodové desky * Motorizované ovladani, sériové rozhrani RS232 a rozhrani USB 3.0
Vybér jazyka  UZivatel mdZe zménit vychozi jazyk operaéniho systému a softwaru Microsoft Office
Displej s dotykovym panelem * RozliSeni 1920 x 1080 optimalizované pro pouZiti se softwarem CIX (23palcova tenkd obrazovka)
Napajeni Jmenovité hodnoty * Napéjeci adaptér (2), ovladac a ram mikroskopu (jsou nutné 4 zasuvky)
® Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz, 10 A
Spotreba elektrické energie « Ovladat: 700 W; Monitor: 56 W; Mikroskop: 5,8 W; Ridici jednotka 7,4 W
o Celkem: 769,2 W
Vykres Rozméry SxHxV) cca 1300 mm x 800 mm x 510 mm (51,2 palce x 31,5 palce x 20 palce)
Hmotnost 44 kg (97 Ib)




BX53M

Systémovy mikroskop (obecné poufZiti)

Rada BX3M byla navrzena s ohledem na modularitu a nabizi univerzalni feseni pro védeckou analyzu materiald

i primyslové vyu2|t| Diky vylepSené integraci se softwarem PRECiIV™ nabizi fada BX3M bezproblémové podminky
pro standardni praci s mikroskopem i s digitalnim obrazem - od pozorovani aZ po tvorbu protokold.

> Celkové zvétSeni: 12,5-1500x

> Metody pozorovani: svétlé pole,
tmavé pole, diferencialni kontrast na
rozhrani a MIX

> Rychlé vyhledani zaostfeni pomoci
indexu stupnice ostfeni na
ramu mikroskopu

> Provzorky o tlouStce aZz 65 mm;
moZnost pozorovat jesté silnéjsi vzorky
pomoci adaptéru na rameno (pouze
u modeld s odrazenym svétlem)

> Kondenzor Ize zvolit pro pozorovani
v prochazejicim svétle

’9;

Zakladni model Standardni model

Pokrocily model

Technické parametry BX53M pro obecné pouziti

Zakladni ‘ Standard ‘ Pokrocilé
Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)
Hlavni sada | R&m mikroskopu | Osvétleni Odrazené svétlo | OdraZzené/prochazejici Odrazené svétlo | OdraZzené/ Odrazené svétlo Odrazené/prochazejici
svétlo prochézejici svétlo svétlo
Ostreni Pojezd: 25 mm, jemny posuv na otacku: 100 ym, minimalni dilkovani: 1 pm, horni zarézka, nastaveni toivého momentu pro hrubou rukojet’
Maximalni Odrazené svétlo 65 mm (bez distan¢ni viozky) 105 mm (s BX3M-ARMAD)
vyska vzorku OdraZené/prochazejici svétlo 35 mm (bez distancni viozky) 75 mm (s BX3M-ARMAD)
Pozorovaci tubus | Siroké pole Inverzni: trinokuldrni

(FN 22)

BX3M-KMA-S: Bila LED dioda, SP/DIC/POL/
MIX FS, AS (se stfedicim mechanizmem), mechanismem),
proklad svétlé/tmavé pole blokovani SP/TP

BX3M-LEDT: Bila -
LED dioda, Abbeho
kondenzory /
kondenzory pro dlouhou
pracovni vzdalenost

Osvétleni odrazenym svétlem BX3M-RLAS-S: Kédované, bila LED dioda, SP/TP/DIC/POL/MIX FS, AS (s vystfedovacim

BX3M-LEDT: Bila -
LED dioda, Abbeho
kondenzory /
kondenzory pro
dlouhou pracovni
vzdalenost

U-D6BDRE: Pro svétlé/tmavé pole: Sesticetné provedeni

BX3M-LEDT: Bila LED dioda,
Abbeho kondenzory /
kondenzory pro dlouhou
pracovni vzdalenost

Osvétleni prochazejicim svétlem -

Oto¢na hlavice objektivil U-5RE-2 pro svétlé pole: Péticetné provedeni U-D6BDRES-S: Pro svétlé/
tmavé pole: Sesticetné

provedeni, kédovéno

WHN10X
WHN10X-H
Pozorovéani MIX -

Okular (FN 22)

BX3M-CB: Ridici jednotka
BX3M-HS: Ru¢ni prepinac
U-MIXR-2: Posuvnik MIX pro
pozorovéni s odrazenym

svétlem

U-MIXRCBL: Kabel pro MIXR
Kondenzor - U-LWCD - U-LWCD - U-LWCD
(dlouhé pracovni vzdalenost)
Hmotnost OdraZené svétlo: cca 15,8 kg OdraZené/prochazejici svétlo: cca 18,3 kg (40,3 Ib) (rdm mikroskopu 7,6 kg (16,8 |b))

(rdm mikroskopu 7,4 kq)

Objektivy Sada MPLFLN Pozorovéni BF/POL/FL: -
MPLFLNS5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Sada MPLFLN BD - Pozorovéni BF/DF/DIC/POL/FL: MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD

Sada MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Pozorovani BF/DF/DIC/POL/FL: MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD

MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, - Pozorovani BF/DF/DIC/POL/FL:

LMPLFLN-BD MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Stolek Sada 76 mm x 52 mm Koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 76 (X) x 52 (Y) mm, s nastavenim to¢ivého momentu: U-SVRM, U-MSSP
(XxY) Sada 100 mm x 100 mm Velkoforméatovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanizmem v ose Y: U-SIC4R2, U-MSSP4

Sada 100 mm x 100 (G) mm

Velkoformétovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanizmem v ose Y (sklenéna deska): U-SIC4R2,
U-MSSPG

Sada 150 mm x 100 mm

Velkoformatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim to¢ivého momentu a zajiStovacim mechanizmem
v ose Y: U-SIC64, U-SHG, U-SP64

Sada 150 mm x 100 (G) mm

Velkoforméatovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajiStovacim mechanizmem
v ose Y (sklenénd deska): U-SIC64, U-SHG, U-SPG64

o Tento produkt je urcen pro primyslové prostredi s dirazem na elektromagnetickou kompatibilitu. PouZiti v obytnych prostordch maZe mit negativni dopad na jind zarizeni.




BX53M

Systémovy mikroskop (specialni pouZiti)

Mikroskop BX3M je urcen pro tradi¢ni primyslovou mikroskopii a ma rozsifené funkce, aby splioval poZzadavky
Siroké Skaly aplikaci a metod kontroly. Konfigurace Fady BX3M nabizeji flexibilitu pfi vybéru systému,
ktery bude nejlépe vyhovovat vasim potfebam.

>
>

>

Celkové zvétSeni: 12,5-1500x

Metody pozorovani: svétlé pole, tmavé pole, diferencialni kontrast na rozhrani, MIX, fluorescence,
infraCervené zareni a polarizace

Rychlé vyhledani zaostfeni pomoci indexu stupnice ostfeni na rdmu mikroskopu

Fluorescencni model Infracerveny model Polarizaéni model



Technické parametry BX53M pro specidlni pouZiti

Fluorescence ‘ Infrafervené ‘ Polarizace
Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)
Hlavnisada | Ram mikro- Osvétleni OdraZené svétlo Odrazené/procha- | Odrazené svétlo Prochazejici
skopu zejici svétlo
Ostreni Pojezd: 25 mm, jemny posuv na otacku: 100 um, minimalni dilkovani: 1 pm, horni zardzka, nastaveni to¢ivého momentu pro hrubou
rukojet’
Maximalni vySka vzorku Odrazené svétlo 65 mm (bez distan¢ni viozky) 105 mm (s BX3M-ARMAD) OdraZené/prochézejici svétlo 35 mm (bez distan¢ni viozky)
75 mm (s BX3M-ARMAD)
Pozorovaci Siroké pole (FN 22) Inverzni: trinokularn{ ‘ Inverzni: trinokularni pro IR Inverzni: trinokuldrni
tubus Prokladova jed- | Objektiv - Zaostfitelné provedeni
notka polarizo- | Bertrand
vaného svétla Blok pole Priimér 3,4 mm (fixni)
(U-CPA) Bertrand
Zapnuti nebo Poloha posuvniku @ uvnit¥
vypnuti pre- Poloha posuvniku O vné
pinani cocek
Bertrand mezi
ortoskopickym
a konoskopic-
kym pozoro-
vanim
Pozice pro ana- Rotacni analyzator s pozici (U-AN360P-2)
lyzator
Osvétleni Odrazené Pozorovani FL | BX3M-URAS-S: Kédované, univerzalni
svétlo odraz, 4polohovy karusel
pro rotaci zrcatka (standard: U-FWUS,
U-FWBS, U-FWGS, U-FBF apod.) s FS, AS
(se stfedicim mechanizmem), s mechani-
zmem zavérky
IR pozorovéni | - BX3M-RLA-S: 100W halogenova lampa pro | -
IR, SP/IR, AS (se stfedicim mechanizmem)
U-LH100IR (véetn& 12V 10 W HAL-L),
100W halogenovy zdroj svétla pro IR
TH4-100: 100W zdroj napajent
TH4-HS: Rucni prepinac
U-RMT: ProdluZovaci kabel
Prochazejici Pozorovani - BX3M-LEDT: Bila LED dioda, Abbeho kon-
svétlo POL denzory / kondenzory pro dlouhou pracovni
vzdalenost

Otocna hlavice objektivil

U-D6BDRES-S: Pro svétlé/tmavé pole:
Sesticetné provedeni, kédovano

U-5RE-2: Pro svétlé pole: Péticetné
provedeni

U-P4RE: Ctytetné stieditelné odnimatelné
komponenty, zpozdovaci desticka pro 1/4
vinové délky (U-TAD), ténovaci desticka
(U-TP530) a riizné kompenzatory Ize nasadit
pomoci adaptéru desky (U-TAD).

Okulér (FN 22)

WHN10X

WHN10X-H

CROSS-WHN10X

Zrcadlové jednotky

U-FDF: Pro tmavé pole

U-FBFL: Pro svétlé pole, vestavény ND filtr

U-FBF: Pro svétlé pole, oddélitelny ND filtr

U-FWUS: Pro Ultra Violet-FL

U-FWBS: Pro Blue-FL

U-FWGS: Pro Green-FL

Filtr/polarizator/analyzéator

U-25FR: Filtr proti ndmraze

U-BP1100IR/U-BP1200IR: Filtry paAsmové
cesty pro IR

431F550-W45: Zeleny filtr

U-POIR: Posuvnik polarizatoru s odrazem
prolR

U-AN360IR: Posuvnik analyzatoru s moz-
nosti otdceni pro IR

U-AN360P-2: Otocné provedeni 360°, mini-
malni dhel otoceni 0,1°

Kondenzor

U-LWCD: Dlouhd pracovni vzdélenost

U-POC-2: Achromaticky beznapétovy konden-
z4tor, 360° otocny polarizator s vyklopnou
achromatickou horni ¢ockou, nastavitelna
aretace v poloze 0°, NA 0,9 (horni ocka uvnitt)
/NA 0,18 (horni ¢ocka venku), clona: nastavi-
telny prdmér v rozmezi 2 a7 21 mm.

Posuvnik/kompenzétory

U-TAD: Posuvnik (adaptér desky)

U-TP530/U-TP137: Kompenzatory

Hmotnost Odrazené svétlo: Odrazené/prochd- | cca 18,9 kg (41,7 Ib) rdm mikroskopu cca 16,2 kg (35,7 Ib) rdm mikroskopu 7,6 kg
cca 15,8 kg (rdm zejici svétlo: cca 7.4kg (16,3 1b) (16,8 b)
mikroskopu 7,4 kg) | 18,3 kg (40,3 Ib)
(rdm mikroskopu
7,6 kg (16,8 Ib))
Svételny Svétlovod U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150: Sada svét-
zdroj s odra- lovodu
zem FL Rtutova lampa U-LH100HGAPO1-7, USH-1030L(x2),
U-RFL-T, U-RCV: Sada rtutové lampy
Objektivy Sada MPLFLN Pozorovéni SP/DIC/POL/FL: MPLFLN5X, -
10X, 20X, 50X, 100X
Sada MPLFLN BD Pozorovéni BF/DF/DIC/POL/FL:
MPLFLNSXBD, 10XBD, 20XBD,
50XBD, 100XBD
Sada MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Pozorovani BF/DF/DIC/POL/FL:
MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD,
50XBD, 100XBD
Sada MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Pozorovéni BF/DF/DIC/POL/FL: MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Sada IR - IR pozorovéni: LMPLN5XIR, -
10XIR,LCPLN20XIR,50XIR, 100XIR
Sada POL - Pozorovéni POL: UPLFLN4XP,10XP,20XP,40XP
Stolek Sada 76 mm x 52 mm Koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 76 (X) x 52 (Y) mm, s nastavenim to¢ivého momentu: U-SVRM, U-MSSP
(XxY) Sada 100 mm x 100 mm Velkoformatovy koaxidIni stolek s rukojeti vpravo, 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanizmem v ose Y: U-SIC4R2, U-MSSP4

Sada 100 mm x 100 (G) mm

Velkoformatovy koaxidIni stolek s rukojeti vpravo, 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanizmem v ose Y (sklenénd deska):

U-SIC4R2, U-MSSPG

Sada 150 mm x 100 mm

Velkoformatovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajiStovacim mechanizmem

v ose Y: U-SIC64, U-SHG, U-SP64

Sada 150 mm x 100 (G) mm

Velkoformatovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajistovacim mechanizmem

Sada POL

v ose Y (sklenénd deska): U-SIC64, U-SHG, U-SPG64

Polariza¢ni otocny stolek + mechanicky stolek:
U-SRP +U-FMP

o Tento produkt je urcen pro pramyslové prostredi s dirazem na elektromagnetickou kompatibilitu. PouZiti v obytnych prostordch mizZe mit negativni dopad na jind zafizeni.




BXFM

Modularni mikroskop

Systém BXFM lze prizpUsobit specidlnim aplikacim nebo integrovat do jinych pfistrojud. Modularni konstrukce
umoznuje snadné prizplsobeni unikatnimu prostredi nebo konfiguraci pomoci riiznych specialnich malych
iluminator( a upinacich prostredkd.
> Celkové zvétSeni: 12,5-1500x

*123-153 (Focus position: 146)

253 **280-310 (Focus position: 303)
Technické parametry BXFM
Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekone¢no)
Rém mikroskopu Pojezd: 30 mm
Jemny posuv na otécku: 200 pm
Minimalni dilkovani: 2 pm
Nastaveni to¢ivého momentu pro hrubou rukojet’
Osvétleni BX3M-RLAS-S Kédované, bild LED dioda, SP/TP/DIC/POL/MIX FS, AS (s vystfedovacim mechanismem)
BX3M-KMA-S Bila LED dioda, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (se stredicim mechanizmem)
BX3M-RLA-S Halogenové Zarovka 100 W/50 W, bila LED, BF/DF/DIC/POL/MIX/ FS, AS (se stredicim mechanizmem), proklad svétlé/tmavé pole, ND filtr
Vzprimené provedeni: trinokularni, naklapéci binokularni
U-KMAS Bil4 LED dioda, 100W halogen, BF/DIC/POL/MIX

o Tento produkt je urcen pro pramyslové prostredi s dirazem na elektromagnetickou kompatibilitu. PouZiti v obytnych prostordch mize mit negativni dopad na jind zarizeni.

BXFM-S

Modularni mikroskop

BXFM-S je cenové vyhodny a prostorové Usporny ostfici drzak pro mikroskopii ve svétlém poli. Drzak zaostreni
Ize pouzit pro optickou lavici, stativ nebo systémovou integraci, diky kompaktni konstrukci a pohodIné montazni
plose. Kompatibilni s celou fadou objektiv(l se standardni a dlouhou pracovni vzdalenosti.

> Celkové zvétSeni: 12,5-1000x

032,106 187

o
S
3 é Of=3&
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0 *
<t =
230.5 1881508 *123—153 (focus position: 146)
2525 204 **280—310 (focus position: 303)
Technické parametry BXFM-S
Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)
Réam mikroskopu Pojezd 30 mm, otacka oto¢ného voli¢e jemného ostreni: 200 pm,

minimalni krok nastaveni: 2 pm,
nastaveni toCivého momentu pro hruby otocny voli¢

Osvétleni BX-KMAS Bila LED dioda, 100W halogen, BF/DIC/KPO




GX53

Metalurgické mikroskopy

Inverzni mikroskop pro metalurgii

Invertovany mikroskop GX53 je uréen pro pouZiti v ocelarském, automobilovém a elektronickém primyslu

a dalSich odvétvich. Vyznacuje se mimoradnou Cistotou obrazu a vynikajicim rozliSenim pfi velkém zvétSeni.

Modularni konstrukce mikroskopu usnadnuje jeho pfizplsobeni presné na miru vasim pozadavkim.

> Celkové zvétseni: 12,5-1500x

> Vkombinaci s kédovanou hlavici objektivl a digitalnim fotoaparatem se stupnice pti zméné zvétSeni
objektivu automaticky prepne.

> Podporuje metody metalurgické analyzy (napf. analyza castic, vyhodnoceni nodularity grafitu a dalsi)
v kombinaci s digitalni kamerou a softwarem PRECiV"

> Efektivni osvétleni s dlouhou Zivotnosti diky vysoce intenzivnimu bilému svételnému zdroji LED

> Metody pozorovani: svétlé pole, tmavé pole, diferencidlni kontrast na rozhrani, polarizace a MIX

Technické parametry GX53

Opticky systém

Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)

Ram mikroskopu

Viyrazend stupnice

Reverzni polohy viech portti (nahofe/dole) z pozorovaci pozice skrze okular

Napéjeci zdroj

Zabudovany napéjeci zdroj iluminatoru (LED)

Ostreni

Rucni koaxidlni hrubé a jemné ostreni, zdvih ostfeni 9 mm (2 mm nad a 7 mm pod povrchem stolku)

Volitelny vystupni port

Predni port: kamera a systém DP (reverzni obraz, specialni adaptér kamery pro GX)
Bocni port: kamera, systém DP (vzpfimeny obraz)

Pozorovaci tubus

Siroké pole (FN 22)

Binokuldrni (U-BI90, U-BI9OCT), trinokuldrni (U-TR30H-2), naklapéci binokuldrni (U-TBI90)

Osvétleni

Metoda pozorovani

Svétlé pole, tmavé pole, jednoduché polarizované svétlo, DIC, MIX (smérové tmavé pole)

Membréna iluminatoru

FS/AS s ru¢nim ovlddénim, s nastavenim vystredéni

Zdroj svétla

Bil LED dioda (standard) / 12 V, 100W halogenova Zarovka / 100W rtutovd vybojka / zdroj se svétlovodem

Oto¢na hlavice objekti

vQ

Svétlé pole - otvory: 4 az 7 ks, typ: rucni/kddované, vystiedéni: povoleno/zakazéno
Otvor pro svétlé/tmavé pole: 5 az 6 ks, typ: ru¢ni’kédované, vystredéni: povoleno/zakdzano

Stolek

Standardni typ

Stolek s rukojeti vpravo pro mikroskop Fady GX (zdvih X/Y: 50 x 50 mm)

Volitelné prislusenstvi

Flexibilni stolek s rukojeti vpravo, flexibilni stolek s rukojeti vlevo (zdvih X/Y: 50 x 50 mm)

VloZzka desky stolku

Sada typU s otvorem ve tvaru kapky a podlouhlym otvorem

Zaznam obrazu

DigitdIni kamera, video
kamera

Objektivy fady DP je mozné nasadit s pouZitim pfislusnych adaptér

Celkova hmotnost

cca 25 kg (55,1 Ib) rém mikroskopu 20 kg (44,1 Ib)

Jmenovity vstup

5VDC, 2,5 A (napajeci adaptér 100-240 V, AC 0,4 A, 50 Hz/60 Hz)
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MX63/MX63L

Mikroskopy pro kontrolu polovodic/FPD

Mikroskopové systémy MX63 a MX63L umozniuji kvalitni pozorovani waferd - substratovych disku o velikosti
az 300 mm, plochych displej, tisténych spojl a dalSich velkych vzorkd. Vyznacuiji se univerzalnimi funkcemi

a ergonomickym, uZivatelsky pFivétivym designem.

vV VvV

Celkové zvétSeni: 12,5-1500x

Rada MX63 splfiuje mezinarodni specifikace a normy véetné standardu SEMI $2/S8, CE a UL
Efektivni osvétleni s dlouhou Zivotnosti diky vysoce intenzivnimu bilému svételnému zdroji LED
Metody pozorovani: svétlé pole, tmavé pole, diferencialni kontrast na rozhrani,

fluorescence, polarizace, infraervené zareni a MIX

MX63
Technické parametry MX63/MX63L
Model MX63 [ Mxe3L
Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)

Ram mikroskopu

Osvétleni
odrazenym svétlem

Bila LED dioda (se Spravcem intenzity svétla) 12 V, 100W halogenova zarovka, 100W rtutova lampa, zdroj se svétlovodem

Rucni prepindni mezi svétlym a tmavym polem a zrcadlovou krychli. (Zrcadlové krychle je volitelnd.)

Vestavéna motorizovana clona (prednastavend pro kazdy objektiv, automaticky oteviend pro pozorovani v tmavém poli)

Pozorovaci metody: svétlé pole, tmavé pole, diferencidini kontrast na rozhrani (DIC)", jednoducha polarizace™, fluorescence™, infratervené zareni*
a pozorovani MIX (¢tyFsmérové tmavé pole)*?

Osvétleni
prochazejicim
svétlem

Jednotka osvétleni prochazejicim svétlem: nutno pouZit MX-TILLA nebo MX-TILLB.
* MX-TILLA: kondenzor (NA 0,5) a velikost apertury

* MX-TILLB: kondenzor (NA 0,6), velikost apertury a blok pole

Zdroj svétla: LG-PS2 (12 V, 100W halogenova Zarovka) Svétlovod: LG-SF

Metody pozorovéni: svétlé pole, jednoducha polarizace

Pozorovaci tubus Zvlasté Sirokouhly trinokularni tubus se vzpiimenym obrazem (FN 26,5): Zvlasté Sirokouhly trinokularni tubus se vzpfimenym obrazem
MX-SWETTR (FN 26,5):
Ostatni: ZvI4sté Sirokouhly trinokuldrni tubus / Sirokouhly binokuldrni tubus MX-SWETTR nebo U-SWETTR-5

Motorizovana hlavice objektivi Svétlé pole

Sesticetny s motorickym pohonem se slotem pro posuv pro DIC: U-D6REMC
Motorizované streditelné péticetné provedeni s posuvnym slotem pro DIC: U-PS5SREMC

Svétlé a tmavé pole

Sesticetny s motorickym pohonem se slotem pro posuv pro DIC: U-D6BDREMC
Motorizované péticetné provedeni s posuvnym slotem pro DIC: U-DSBDREMC
Motorizované streditelné péticetné provedeni s posuvnym slotem pro DIC: U-P5BDREMC
Motorizovana rota&ni hlavice objektivii s funkci podtlaku: U-D5BDREMC-VA

Stolek MX-SIC8R 8 palcti x 8 palct (stolek) MX-SIC1412R2 14 palcd x 12 palcti (stolek)
Rozsah: 210 x 210 mm Rozsah: 356 x 305 mm (plocha osvétlend prochazejicim svétlem:
(plocha osvétlend prochézejicim svétlem: 189 x 189 mm) 356 x 284 mm) kombinace s MX-TILLB
MX-SIC6R2 6 palctl x 6 palct (stolek)
Rozsah: 158 x 158 mm (pouZiti odrazeného svétla pouze s MX63)
Kluzny mechanizmus s véle¢kovym vedenim, pohon femenem (bez ozubenych pfevodu), funkce zab&rové spojky (systém odepinani hnaciho
femene)

Jmenovity vstup Osvétleni odrazenym svétlem: 100-120 V/220-240 V AC 1,9/0,9 A, 50 Hz/60 Hz

Osvétleni prochazejicim svétlem: 100-120 V/220-240 V AC 3,0/1,8 A 50/60 Hz

Rozméry (S x Hx V)

cca 509 x 770 x 507 mm (20 x 30,3 x 20 palct) cca 711 x 790 x 507 mm (28 x 31,1 x 20 palc()

Hmotnost

cca 35,6 kg (78,5 Ib) rdm mikroskopu 26 kg (57,3 Ib) cca 44 kg (97 Ib) ram mikroskopu 28,5 kg (62,8 Ib)

*1 Volitelnd zrcadlovd krychle. *2 Je nutnd konfigurace pro pozorovdni MIX.




AL120

Podavac¢ wafert

Podavac wafert

Podavac waferd AL120 prenasi kfemikové i slozené polovodicové wafery z kazety na stolek mikroskopu

s rozSifenymi moznostmi a flexibilitou, aniz by to mélo vliv na ergonomii.

> Celkové zvétSeni: 12,5-1500x
> Na vybér méte ze tfi modell podle priméru waferu: Typ 200 mm, konvertibilni typ 150 mm / 200 mm a typ
150 mm pro rozmér waferu 150 mm nebo méné

Technické parametry AL120

Podavac waferti AL120 (model 200 mm) s mikroskopem MX63 pro kontrolu polovodict

Model Typ 200 mm Konvertibilni typ 200 mm / 150 mm Typ 150 mm
Polozka AL120-LMB8-90 AL120-LMB86-180 ‘ AL120-LMB86 AL120-LMB6-150 AL120-L6-150
Rozmér waferu (norma SEMI) 200 mm 200 mm /150 mm 150 mm /125 mm /100 mm
Minimalni tloustka waferu 90 um 180 pm ‘ 400 pm 150 pm
Typy kazet"! Standard SEMI 25 (26) pozic
Pocet kazet 1
Predpis kontroly VSe/vzorkovani
Sekvence kontroly | Mikro v v v v v
(mikroskop)
Makro horni v v v v
strany
Makro zadni v v v v
strany
2. Makro zadni v v v
strany
Orientace waferu (kazdych 90°) Bezkontaktni (O.F./zéFez) Bezkontaktni (O.F.)
Kompatibilni model mikroskopu Mikroskop pro kontrolu polovodi¢t MX63
Rozméry (S x H x V) 640 x 620 x 378 mm (25,2 x 24,4 x 14,9 palce) Pouze télo 570 x 620 x 400 mm (22,4 x 24,4 x 15,7 palce) Pouze télo
1100 x 620 x 378 mm s mikroskopem 980 x 620 x 400 mm s mikroskopem
Hmotnost (kg) (pouze hlavni télo) 44 (97 Ib) ‘ 44 (97 Ib) 44 (97 Ib) 40 (88,2 Ib) 37 (81,6 1b)

Nastroje

AC100 V-120V, 1 A nebo AC220 V-240V, 0,5 A 50/60 Hz, -67 az -80 kpa, 20 | nebo vice/min.

*1 Pro vSechny modely je registrovdno aZ 10 typd kazet.
© Wafery vSech typu je nutno pred instalaci zafizeni otestovat.




AR mikroskop

SZX-ART

Mikroskopovy systém s roz

v rv

Sifenou realitou

Systém mikroskopu AR1 umoZiuje prekryt text a digitalni
obrézky pres zorné pole mikroskopu, coz montaznikiim
usnadniuje sledovani pokynd, ¢teni poznamek a dokonce

i sledovani videi, aniz by museli odlepit oci od okulard.

Modul AR1 Ize pouZit s naSimi stereoskopickymi mikroskopy.
PouZziti modulu proméni tyto mikroskopy v nastroje

s rozSifenou realitou, které zvysi rychlost a ucinnost vyrobnich
ukon i Skoleni vyZaduijicich pouziti mikroskopu.

Technické parametry SZX-AR1

Hardware

AR naklapéci trinokuldrni tubus SZX2-ARTTR

Uhel pozorovaciho tubusu: 5 aZ 45 stupfid

Rozsah nastaveni pupildrni vzdélenosti: 57 az 80 mm

Osazeno upinacim oto¢nym volicem okuldru

PFepinaci mechanizmus drahy svétla: Zadny

ZvétSeni okularu: 1,25x, zvétSeni kamery: 1x

Funkce tlacitek na celnim panelu: Nastaveni jasu snimku AR (7 Urovni) a zapnuti/vypnuti snimku AR

Vstupni konektory: HDMI x 1, USB 2.0 (typ C) x 1, DC jack x 1

Napéti pohonu: AC 100-240 V (napdjeci adaptér)

Maximalni prikon: 10 W

Metoda zvétSeni priblizeni

Hlavni funkce:

(a) Nastaveni zvétSeni priblizeni (pouze v poloze zaklapnuti)

(b) Ovladéni posuvnikd v softwaru vpred a vzad

Vystupni konektor: USB 2.0 (typ C)

Software

Ovladaci funkce kamery

Kontrola expozice: Pfepindni mezi automatickym a ru¢nim rezimem

Nastaveni citlivosti ISO: ISO 100, 200, 400

Funkce nastaveni vyvaZeni bilé: Osazeno (nastaveni jednim dotykem)

Funkce pofizeni

Pofizovani snimkd

Format uklddani: BMP, JPEG, PNG

RozliSeni: DP23: 3088 x 2076, DP28: 4104 x 2174

Snimek z kamery je moZné uloZit zaroven se snimkem z AR

Zaznam

Format pro ukladani soubord: mp4, mov; Video kodek: H264

Formét audia: MP3; Audio kodek: mp3

RozliSeni: DP23: 1920 x 1080 (rozsah obrazu kamery: 1600 x 1080), DP28: 1920 x 1080 (rozsah obrazu kamery: 1920 x 1080
)

Mimo rozsah obrazu kamery nelze zaznamendvat video

Snimek z kamery je mozné uloZit zaroven se snimkem z AR

Doba zaznamu je pfiblizné jedna hodina

Funkce ¢arového kédu

Software SZX-AR1 umoziuje vygenerovat QR kdd spojeny s danym postupem

Naskenovénim QR kédu pomoci éte¢ky v zorném poli okuldru miZete vyvolat pozadovany postup

Kompatibilni ¢te¢ka ¢arovych kddu

K dispozici je COM komunikace

Je mozné nacist QR kéd

Vystupni ¢arovy kéd: QR kéd

Jazyk softwaru

Jazyk softwaru

angli¢tina, japonstina, ¢instina, némcina, Spanélitina, portugalstina, francouzstina

PoZadavky na pocita¢

Operacni systém

Windows 10 Pro (64-bit), Windows 10 Pro for
Pracovni stanice (64-bit)

Verze systému Windows 10: 2004, 21H1

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (v kombinaci s modelem DP23 nebo DP28)

Jazyk operacniho systému

anglictina, japonstina

Procesor

10th Gen Intel® Core™ i5 nebo novéjsi (nebo ekvivalent)
(doporucené jadro: 4 nebo vice, frekvence hodin: 3,2 GHz)

Pamét’

8 GB nebo vice

Kapacita paméti pro instalaci softwaru

1 GB nebo vice

Ovladac grafické karty

Intel UHD Graphics 630 nebo vyssi

RozliSeni monitoru

1366 x 768 nebo vyssi

USB rozhrani

USB 2.0 typ A x1 (pro pripojeni k nakldpécimu trinokuldrnimu tubusu AR)

USB 2.0 typ-A x1 (pro senzor zvétSeni priblizeni)

USB 3.1 typ A x1 (pro kameru DP23 a DP28)

Rozhrani monitoru

HDMI x 1 (pro pfipojeni nakldpéciho trinokularniho tubusu AR)

HDMI 1.4 nebo vyssi

HDMI konektor: Typ A




SZX16

Stereo mikroskopovy systém pro vyzkum

Stereo mikroskopy

Mikroskop SZX16 je urcen pro velmi ndrocné aplikace se schopnosti rozlisit 900 pard ¢ar na milimetr. PIny rozsah

zoomu (0,7x-11,5x) Ize rozsifit pomoci naseho dvojitého karuselu.
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Stihlé provedeni SZX16, prochazejici svétlo LED,
kombinace s osvétlovaci zakladnou SXZ2-ILLTQ

SZX10

Technické parametry SZX16

Zoom téla Pomér priblizeni: 16,4:1 (0,7x-11,5x)

mikroskopu Indikace zvétSeni: 0,7/0,8/1/1,25/1,6/2/2,5/3,2/4/5/6,3/8/10/11,5
Vestavéné zoomovaci télo mikroskopu AS, upnuti objektivu: Sroubovaci drzak

Objektiv SDFPLFLO.3x NA 0,045 W.D. 141 mm
SDFPLAPOO0.5xPF NA 0,075 W.D. 70,5 mm
SDFPLAPO0.8x NA 0,12 W.D. 81 mm
SDFPLAPO1XPF NA 0,15 W.D. 60 mm
SDPLAPO1.6xPF NA 0,24 W.D. 30 mm
SDFPLAPO2XPFC NAO,3 W.D. 20 mm

Okular WHN10x-H: FN 22, WHSZ15x-H: FN 16, WHSZ20x-H: FN12,5, WHSZ30x-H: FN 7

Pozorovaci tubus | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: Naklapéci trinokularni hlava

Nastaveni Konvergencni Ghel, Ghel néklonu: 5°-45°, volba trasy svétla: 2 (TTR:

pupilarni Bi 100 %, Bi 50 % / kamera 50 %. TTRPT: Bi 100 %, kamera 100 %)

vzdalenosti: SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: Trinokularni hlava 30 stupfid

52-76 mm Konvergen¢ni thel, thel nédklonu: 30°, volba trasy svétla: 2 (TR30:

Bi 100 %, Bi 50 % / kamera 50 %. TR30PT: Bi 100 %, kamera 100 %)

Sestava ostfeni

SZX2-FO: Jednotka ostfeni (s nastavenim tocivého momentu)
Rozsah hrubé rukojeti: 80 mm, posuv hrubé rukojeti na otacku: 21 mm, max. zatiZeni: 0-10,0 kg

SZX2-FOF: Jednotka jemného ostreni (s nastavenim toCivého momentu)
Rozsah hrubé/jemné rukojeti 80 mm, posuv hrubé rukojeti na otacku 36,8 mm, posuv jemné
rukojeti: 80 mm, posuv jemné rukojeti na otdcku: 0,77 mm, max. zatizeni: 2,7-15,0 kg

SZX-FOA2: Motorizovand jednotka ostreni

Stojanky

SZX-ST: Stojanek B
Vy3ka sloupku: 270 mm (10,6 palce), zakladni rozméry (S x H x V): 284 x 335 x 31 mm (11,2 x 13,2 x
1,2 palce)

SZX2-STL: Velky stojanek .
Vy3ka sloupku: 400 mm (15,7 palce), zakladni rozméry (S x H x V): 400 x 350 x 28 mm (15,7 x 13,8 x
1,1 palce)

Stereo mikroskopovy systém pro vyzkum

Mikroskop SZX10 ma pomeér zvétseni 10:1 (0,63x-6,3x) a je logickou volbou, pokud je pro vas dulezita
pracovni vzdalenost a velikost pole. N&s dikladny systém vybéru konstrukce objektivii umozriuje pozorovani
a dokumentaci vzorka v jejich pavodnich autentickych barvach bez zkresleni.

'.

SZX10

Technické parametry SZX10

Zoom téla Pomér priblizeni: 10:1 (0,63x-6,3x) Indikace zvétSeni: 0,63/0,8/1/1,25/1,6/2,5/3,2/4/5/6,3
mikroskopu | vestavéné zoomovaci télo mikroskopu AS, upnuti objektivu: Sroubovaci drzak
Objektiv DFPLO.5x-4 NA 0,05 W.D. 171 mm
DFPLO.75x-4 NA 0,075 W.D. 116 mm
DFPLAPO1x-4 NAO,1 W.D. 81 mm
SZX-ACH1x NAO,1 W.D. 90 mm
DFPLAPO1.25x NA 0,125 W.D. 60 mm
SZX-ACH1.25x-2 NA 0,125 W.D. 68 mm
DFPL1.5x-4 NA 0,15 W.D. 45,5 mm
DFPL2x-4 NA 0,2 W.D. 33,5 mm
Okular WHSZ10x-H: FN 22, WHSZ15x-H: FN 16, WHSZ20x-H: FN 12,5, WHSZ30x-H: FN 7
Pozorovaci SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: Naklapéci trinokuldrni hlava
tubus Konvergencni Ghel, thel naklonu: 5°-45°,
Nastaveni volba trasy svétla: 2 (TTR: Bi 100 %, Bi 50 % / kamera 50 %. TTRPT: Bi 100 %, kamera 100 %)
pupilarni SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: Trinokularni hlava 30 stuprit
vzdalenosti: | Konvergenini Uhel, Ghel ndklonu: 30°, volba trasy svétla: 2 (TR30: Bi 100 %,
52-76 mm Bi 50 % / kamera 50 %. TR30PT: Bi 100 %, kamera 100 %)
Binokuldrni hlava SZX-BI30 30°, binokuldrni hlava SZX-BI45 45°, naklapéci binokularni hlava SZX-TBI
Sestava SZX2-FO: Jednotka ostfeni (s nastavenim to¢ivého momentu)
ostreni Rozsah hrubé rukojeti: 80 mm, posuv hrubé rukojeti na otdcku: 21 mm,
max. zatizeni: 0-10,0 kg
SZX2-FOF: Jednotka jemného ostreni (s nastavenim toc¢ivého momentu)
Rozsah hrubé/jemné rukojeti 80 mm, posuv hrubé rukojeti na otdcku 36,8 mm, posuv jemné rukojeti:
80 mm, posuv jemné rukojeti na otdcku: 0,77 mm, max. zatiZeni: 2,7-15,0 kg (6-33 Ib)
SZX-FOA2: Motorizovana jednotka ostreni
Stojanky SZX-ST: Stojanek N
Vyska sloupku: 270 mm, zakladni rozméry (S x H x V): 284 x 335 x 31 mm (11,2 x 13,2 x 1,2 palce)
SZX2-STL: Velky stojanek .
Vyska sloupku: 400 mm, zékladni rozméry (S x H x V): 400 x 350 x 28 mm (15,7 x 13,8 x 1,1 palce)
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Stereo mikroskopy

SZX7

Stereo mikroskopy

Stereo mikroskop SZX7 ma pomér zvétSeni 7:1 (0,8x aZ 5,6x) a vestavénou ochranu proti elektrostatickym
vybojim. Vyuziva pokrocily opticky systém Galilean, ktery nabizi kvalitni obraz s vysokym rozliSenim se snadno
pristupnymi ovladacimi prvky pro komfortni pozorovani za vyhodnou cenu.

Technické parametry SZX7

——

"u%

SZX7+SZX-BI45 SZX7+SZX2-TR30

Zoom téla mikroskopu
SZX-ZB7
PoutZity bezolovnaté materidly

Aretace pro jednotliva zvét3eni pfiblizeni: MoZnost zapnuti/vypnuti
Hodnoty poméru priblizeni: 7:1 (0,8x az 5,6x)

Indikace zvétSeni priblizeni: 0,8, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4,5, 5,6
Montdz objektivu: Nasroubovani do zavitu

Ovladani aperturni irisové clony: Jednotka AS (SZX-AS) je odnimatelnd

Pozorovaci tubus SZX-BI45 SZX-TBI/SZX2-TTR SZX2-TR30
SZX-BI45 Binokuldrni tubus Naklapéci binokularni (trinokuldrni) tubus Trinokularni tubus
SZX-TBL Pozorovaci thel 45° Zorny uhel 5° a 45° Pozorovaci thel 30°
SZX-TR30 PoufZity bezolovnaté materidly Volba trasy svétla: 2 kroky (100%
binokularni, 50 % video / 50 % binokuldrni)
Rozsah nastaveni pupildrni vzdalenosti: 52 a7z 76 mm
Stojanek SZ2-ST SZ2-ILST
S72-ST Standardni stojanek Stojanek pro osvétleni odrazenym/prochazejicim svétlem LED
SZ2-ILST Instalace rdmu Primér montaZe: 76 mm
Nastaveni ostreni Zdvih ostreni: 120 mm
Deska stolku SZ2-SPBW (Cernobilé provedeni pro anti-ESD) Veetné specialni sklenéné desky
SP-C (deska z Cirého skla) o tloustce 100 mm
Zdroj svétla MozZnost montaze kompaktniho osvétleni svétlovodu (SZ2-CLS) Osvétleni prochazejicim svétlem: LED
(volitelné) OdrazZené svétlo: LED
MoZnost montaZe nastavce pro osvétleni vysilanym svétlem (SZ2- | Primérna Zivotnost LED: 6000 hodin
ILA) Jmenovity vstup: 100-120 V/200-240 V ~ 0,15/0,1A, 50/60 Hz
(volitelné)
Objektiv Model NA Pracovni vzdélenost
V&echny objektivy: bezolovnaté materidly DFPLO.5x-4* 0,05 171 mm
* PFi pouziti modelu SZ2-ST/SZ2-ILST je nutno pouZit DFPLO0.75x-4 0,075 116 mm
pomocnou objimku SZ2-ET. DFPLAPO1x-4 0.10 81 mm
DFPLAPO1.25x 1,25 60 mm
SZX-ACH1x 0,10 90 mm
SZX-ACH1.25x-2 0,125 68 mm
DFPL1.5x-4 0,15 45,5 mm
DFPL2x-4 0,20 33,5mm

Okulary VSechny okuldry: bezolovnaté materidly

Rada ComfortView WHSZ




$261/5Z51

Stereo mikroskopy

Mikroskopy SZ61 a SZ51 poskytuji obraz s vynikajici hloubkou ostrosti, jasem, detaily a vérnymi barvami
a vestavénou ochranou proti elektrostatickym vybojim. Jejich spolehliva, vysoce vykonna optika predstavuje
Ustredni prvek pfri vytvareni konzistentné presnych vysledkd.
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$761/SZ501 SZ61TR SZ61-60/SZ51-60
Technické parametry SZ61/5Z51

Télo mikroskopu SZ61 $Z61-60 SZ61TR SZ51 $Z51-60
SZ61 ZvétSen{ 0,67x aZ 4,5x 0,8x az 4x
S761-60 Pomér priblizeni 6,7:1 5:1
SZ61TR Pracovni vzdalenost 110 mm
SZ51 Uhel néklonu tubusu 45° ‘ 60° ‘ 45° ‘ 45° ‘ 60°
$751-60 Nastaveni pupilarni Levy/pravy proklad

vzdalenosti Rozsah nastaveni: 52 aZz 76 mm (s pouZitim okuldri WHSZ10X)

Moznost pfizpUsobeni video — — Typ C (0,5x vestavény) ‘ — ‘ —

kamery

Otocny voli¢ zoomu Horizontalni otocny voli¢ pro nastaveni levého/pravého kanalu

Vestavény doraz pupilarni vzdalenosti pro vysoké/nizké zvétSeni

Optické komponenty PouZity bezolovnaté materialy
Pomocny objektiv Montéz nasroubovanim do zavitu ve spodni ¢asti rdmu (zavit M48 X 0,75)
Okular Rada ComfortView WHSZ

PoufZity bezolovnaté materidly

Stojanek 522-ST SZ2-ILST
SZ2-ST Standardni stojanek Stojének pro osvétleni odrazenym/prochdzejicim svétlem LED
SZ2-ILST Instalace rdmu Prdmér montdze: 76 mm

Nastaveni ostreni

Zdvih ostreni: 120 mm

Deska stolku

SZ2-SPBW (cernobilé provedeni pro anti-ESD)
SP-C (deska z Cirého skla)

Vcetné specidini sklenéné desky
o tloustce 100 mm

Zdroj svétla

MozZnost montaze kompaktniho osvétleni svétlovodu (SZ2-CLS)
(volitelné)

MoZnost montaze néstavce pro osvétleni vysilanym svétlem (SZ2-

ILA)
(volitelné)

Osvétleni prochdzejicim svétlem: LED

OdraZené svétlo: LED

Prdmérna Zivotnost LED: 6000 hodin

Jmenovity vstup: 100-120 V/200-240 V ~ 0,15/0,1 A, 50/60 Hz

Stereo mikroskopy
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Mé&Frici mikroskop

STM7

Méfici mikroskop

Mikroskopy STM7 umoZznuji univerzalni a vykonné triosé méreni dill a elektrickych soucastek se submikronovou
presnosti. At uzZ jsou vzorky malé nebo velké, jednoduché nebo sloZité, nebo méreni provadi zacatecnik Ci
odbornik, Ffada STM7 nabizi méFici mikroskopy pfesné pro vase potreby.

> Maximalni zdvih méreni: 300 mm x 300 mm
> DalSi zvySeni efektivity prace pomoci volitelnych
jednotek, jako je automatické ostfeni nebo

navigator ostreni.

> Ostreni |ze ovladat bud ruc¢né

nebo motoricky
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Technické parametry STM7
Rucni typ Motorizovany typ
Maly stolek Stolek stredni velikosti Velky stolek Stolek stredni velikosti Velky stolek
Télo mikroskopu STM7-SF STM7-MF STM7-LF STM7-MFA STM7-LFA

svétlo

Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno) Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)
Rém Metoda pozorovani BF/DF/DIC/KPO™ BF/DF/DIC/KPO™!
mikroskopu | odrazené/prochézejici | Odrazené/prochazejici svétlo Odrazené/prochézejici svétlo

Systém osvétleni LED

Bila: pro osvétleni odrazenym svétlem, zelend barva: pro osvétlen{ prochazejicim

Bila: pro osvétleni odrazenym svétlem, zelend barva: pro

svétlem osvétleni prochazejicim svétlem
Ostreni | Pojezd 175 mm 145 mm 175 mm 145 mm
Maximalni 120 mm (s méficim objektivem) 120 mm (s méricim 120 mm (s méricim 120 mm (s méficim objektivem)
méfitelnd 175 mm (s metalurgickym objektivem) objektivem) objektivem) 175 mm (s metalurgickym
vyska 175 mm (s metalurgickym 175 mm (s metalurgickym | objektivem)*2
objektivem)* objektivem)
Rozliseni pfi 0,1 um 0,1 um
mérenive
sméru osy Z
Zplsob Rucni otocné koaxidlni ovladace jemného/hrubého zaostreni Motorizovany pohon
pohonu ve * Tlacitko ostreni: Hruby pohyb rychlosti 8 mm/s (max.)
sméru osy Z ¢ Otocny voli¢ jemného/hrubého ostfeni: Rychlost pohybu pri
jemném ostrenti Ize volit ze 4 hodnot (800 um, 400 pm, 100 pm,
50 ym)
Objektivy MéFici objektivy / metalurgické objektivy MéFici objektivy / metalurgické objektivy

Pozorovaci tubus

Monokuldrni tubus se vzpfimenym obrazem, trinokuldrni tubus se vzpfimenym

obrazem (100:0/0:100)

Monokuldrni tubus se vzpfimenym obrazem, trinokularni tubus
se vzpfimenym obrazem (100:0/0:100)

Stolek Pojezd 100 (X) x 100 (Y) mm 200 (X) x 200 (Y) mm 300 (X) x 300 (Y) mm 200 (X) x 200 (Y) mm 300 (X) x 300 (Y) mm
Presnost méreni (3+2L/100) pm (3+4L/200) pm (3+6L/300) pm (3+4L/200) pm (3+6L/300) pm
(L: délka méreni)
Hmotnost 6 kg (13,2 Ib) 10 kg (22 Ib) 15 kg (33 Ib) 10 kg (22 Ib) 15 kg (33 Ib)
pro zajiSténi presnosti
Pocitadlona | Pocet os Tri Tri
displeji Jednotka um / mm / palec / mil um / mm / palec / mil
Minimalni rozliseni 0,1 um 0,1 um
Rozméry SxHxV) 466 x 583 x 561 mm 606 x 762 x 651 mm 804 x 1024 x 686 mm 606 x 762 x 811 mm 804 x 1024 x 844 mm
(18,3 x 23 x 22 palctl) | (23,9 x 30 x 25,6 palce) (31,7 x 40,3 x 27 palcl) (23,9 x 30 x 31,9 palce) (31,7 x 40,3 x 33,2 palce)
Hmotnost 84 kg 152 kg (335,1 Ib) (cca) 277 kg (610,7 Ib) (cca) 159 kg (350,5 Ib) (cca) 284 kg (626,1 Ib) (cca)
(185,2 Ib) (cca)

*1 Jednoduché pozorovdni v polarizovaném svétle.
*2 Pri pouZiti velkého rdmu STM7-LF/STM7-LFA Ize vzorek, jehoZ vyska je maximdlné 100 mm, umistit do polohy 180 mm nebo vice smérem dozadu od svételné osy.




USPM-RU-W

NIR mikrospektrofotometr

MozZnost provadét spektrometrii v Sirokém rozsahu vinovych délek od viditelného po blizké infracervené svétlo
(380-1050 nm). M{iZete provadét presné a rychlé méreni zakfivenych povrchi a drobnych plosek o priméru 17 az
70 pm. Software pro spektralni analyzu ma snadno pouZzitelné uZivatelské rozhrani.

Oblasti pouZziti:

> Opticka zafizeni na sférickych/
asférickych plochach i

> Mikroskopicka elektronicka zafizeni, LED €.
reflektor, plocha optika nebo optické filmy

313
Technické parametry USPM-RU-W
Méreni odrazivosti Méreni propustnosti*! Méreni odrazivosti v Ghlu 45 stuprid™
Néazev NIR mikrospektrofotometr Méreni propustnosti pro Sada pro méfeni odrazivosti v Ghlu 45 stupfiti pro
mikrospektrofotometr NIR NIR mikrospektrofotometr
Model USPM-RU-W
Mérenad vinova délka | Ve srovnani s referenénim vzorkem pro méreni Propustnost se méfi standardné na Ve srovnani s referen¢nim vzorkem pro méreni
100 %
Metoda méreni Ve srovnani' s referencnim vzorkem pro méfeni Propustnost se méri standardné na Ve srovnani s referenc¢nim vzorkem pro méreni
100 %
Rozsah méreni Viz technické parametry objektivu nize cca Pramér 2,0 mm
Opakovatelnost Méreni Pri pouZziti 0,02 % nebo méné (430 az 1010 nm) | 0,3 % nebo méné (430 az 1010 nm)
méfeni (3s)*? odrazivosti objektivl
10x a 20x
Pri pouZiti 0,2 % nebo méné (kromé vyse 1,0 % nebo méné (kromé vySe uvedeného pripadu)
objektivu 40x uvedeného pripadu)
0,05 % nebo méné (430 az 950 nm)
Méreni tloustky filmu +1% —
Osvétlovaci Specialni halogenovy zdroj svétla, JC12V 55 W (prlimérna Zivotnost: 700 hodin)
prislusenstvi
Posuvny stolek Rozméry plochy pro zakladani (S x H): 200 x 200 mm (7,9 x 7,9 palce), pracovni rozsah: (XY) 40 mm, (Z) 125 mm, zatiZeni stojanku: 3 kg (6,6 Ib)
Naklapéci stolek _ Rozméry plochy pro zakladani (3 x H): 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 palce),
maximalni zatiZzeni: 1 kg, pracovni rozsah: (XT) 1°, (YT) 1°
Hmotnost Hlavni télo: cca 26 kg (57,3 Ib) (bez PC) Hlavni télo: cca 31 kg (68,3 Ib) (bez PC)*
Ridici jednotka napajeni: cca 6,7 kg (14,8 Ib)
Rozméry Hlavni télo: cca 360 x 446 x 606 mm (14,2 x 17,6 x 23,9 palce) Hlavni télo: cca 360 x 631 x 606 mm (14,2 x 24,8 x 23,9 palce)
GxHxV) Ridici jednotka napajent: 250 (5) x 270 (H) x 125 (V) mm
Specifikace napajeni | Specifikace vstupu: 100 az 240 VAC, 110 VA 50/60 Hz
Provozni prostredi Na horizontalni rovinu nepusobi vibrace, teplota: 15 °C az 30 °C

*1 Volitelnd jednotka *2 Méfeno v podminkdch mérfeni nasi spolecnosti. *3 Celkovd slou¢end hmotnost instalované sady pro méfeni propustnosti a sady pro méfeni odrazivosti v thlu 45 stupfid je zhruba
33kg (72,8 1b)

Specifikace objektivu

Model USPM-OBL10 USPM-OBL20 USPM-OBL40
Zvétseni 10x 20x 40x

NA méreni* 0,12 0,24 0,24
Rozsah méreni*® 70 um 35um 17,5 ym
Pracovni vzdélenost 14,3 mm 4,2 mm 2,2mm
Polomér zakfiveni vzorku 5 mm nebo vice 1 mm nebo vice 1 mm nebo vice

*4 LiSi se od NA objektivu *5 Priimér bodu
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Software pro obrazovou analyzu

PRECiV

Zobrazovaci a mérici platforma

Snadno ovladatelny software PRECiV" pro ovladani mikroskopu pro lepsi vykon a pfesna opakovana 2D méfeni

pri vyrobé, kontrole kvality a inspekcich. Ziskate vysledky, které vyhovuji nejnovéjsim primyslovym normam,
a mudZete vytvaret profesionalni zpravy, které Ize snadno exportovat do vasi firemni sité. Robustni funkce pro

sdileni a zabezpeceni dat, software PRECiV urychluje a zefektiviiuje vas postup.

Snimanf{

Jadro

Desktop

Pofizovani snimkut

Zakladni pofizovani snimk z naSich kamer véetné automatické kalibrace

Roz3ifené pofizovani snimki vetné funkce HDR, Zivého HDR (s DP75) a navigatorem polohy

QOdstranéni halace pomoci slideru MIX (mikroskop) nebo kruhového LED osvétleni (stereoskopicky mikroskop)

Roz3ifeny ohniskovy obraz (EFI) pfi pouZiti manudlniho nebo okamzitého rezimu

Pofizovani velkoformatovych snimkd (panorama) pii pouZiti manualniho nebo okamZitého reZzimu

Kombinace EFI a panorama v ru¢nim rezimu

O |0 NSNS

ANANANANENAN

Nastroje pro zobrazovani a pfizptsobeni

Prekryvna informacni vrstva (méfitko, nitkovy kfiz, digitalni mrizka)

Statické anotace

Pfiblizeni Zivého obrazu

ASNANAN

SNINIS

AANA

Méreni / obrazova analyza

Zakladni interaktivni méfeni (libovolna ¢ara, lomena cara, kruznice tfemi body, obdélnik, otoceny obdélnik, Ghel tfemi body, Ghel ¢tyfmi body, kolma
Céra, vzdalenost rovnobéznych car, plocha mnohothelniku, vzdalenost XY, vzdélenost mezi dvéma pritkami, vzdalenost mezi kruznicemi, linedrni
pravitko, souradnice bodui)

Pokrotila interaktivni méreni, véetné automatické detekce kraji a pomocnych ¢ar (vodorovnd €éra, svisla ¢ara, Ghlomér, kruznice ze 2 bodu, oto¢ena
elipsa, uzavreny mnohouhelnik, ukazovatko, interpolovany mnohouhelnik, nékolik kolmych ar, asymetrické cary, tloustka hrdla)

Filtry pro vylepSeni obrazu (filtry pro detekci hran, vyhlazovaci filtry a filtry zlep3ujici ostrost), nastaveni intenzity a kontrastu, korekce stinovani,
odecteni pozadi, dynamické zobrazovani na zékladé kontrastu, morfologické filtry

Tvorba protokolt

Export dat do vlastniho seSitu

Export dat do aplikace Microsoft Excel

ANAN

Tvorba protokoll a prezentaci v Microsoft 365 nebo Office 2019, 2021

SNISIS

SNISNS

Podpora zafizeni*!

NaSe mikroskopy*? a kamery*

SWIR kamera treti strany

Motorizované stolky a kédované ovladace stolku™

o |O

o |o

Volitelné dopliiky

Pocitani a méreni

Materidlova feSeni pro PRECiV (napf: urcovani velikosti zrna, nekovové vméstky, litina, tloustka vrstvy, poréznost, distribuce ¢astic, tloustka povlaku,
fazova analyza, vzdalenost vétvi dendriti)

Motorizace zafizeni X, Y, Z

Pofizovani 3D snimkd (pouze ovlddani v ose z)

Trénink neuronové sité

Srovnani grafd podle vybranych norem pro velikost zrna, ur€ovani velikosti grafitu, nekovové vméstky a kalené kovy

Softwarova reSeni na miru

oOooOoOo|Oo o

OooOo| o o

o |0 o

/: Standardni prvek; O: volitelna funkce

PoZadavky na pocitac

Procesor Intel Core i5, i7, i9

RAM/HDD 8 GB/ 2,4 GB volného mista

Operacni systém Windows 10 (64-bit); Varianty: Pro. Pro for Workstations, Enterprise

.Net Framework Verze 4.6.2 nebo vyssi

Optimalizované rozliseni 1920 x 1080

Aktivace licence Internetovym pripojenim nebo na zakladé kédu

Grafickd karta 64bitova graficka karta s 2 GB RAM (kompatibilni s CUDA 9.1 se specidlnimi kombinacemi)




Digitalni kamery

Digitalni mikroskopické kamery

Nase digitalni mikroskopické kamery jsou urceny vyhradné k poufZiti s naSimi mikroskopy. VSechny kamery
nabizeji nejlepsi vykon digitalniho zpracovani obrazu s mikroskopy Olympus a softwarovymi systémy pro
obrazovou analyzu.

Pozndmka: Podrobné informace o produktech naleznete v prehledovém katalogu kamer.

OLYMPUS
DP75

TLYMPUS

DP75

DP28

DP23

RozliSeni (megapixely)

49,2

8,9

6,4

Velikost obrazového snimace

1,1 palce Barevny CMOS

1 palec Barevny CMOS

1/1,8 palce Barevny CMOS

Velikost pixelu (um)

3,45 % 3,45

3,45 3,45

2,4x%2,4

Doby expozice 28 ps-120's 27 pus-15s 29 ps-15s
Dynamicky rozsah*1 12bitovy 10bitovy 10bitovy
Snimkové frekvence Zivého zobrazeni*2 | 60 az 22 64 az30 60az30

Filtr pro odfiltrovani IR

PFepinatelny
vstup: 400 nm ~ az 650 nm
Venku: 400 nm~ a7 1000 nm

Rozméry (@ x V)

116 mm x 92,3 mm
(4,6 palce x 3,6 palce)

76,7 mm x 37,3 mm
(3 palce x 1,5 palce)

76,7 mm x 37,3 mm
(3 palce x 1,5 palce)

Hmotnost (priblizné)

1400 g (49,4 unce)

380 g (13,4 unce)

3809 (13,4 unce)

ReZim 3CMOS Dostupny — —
Funkce LiveHDR Dostupny — —
Upnuti kamery Typ C Typ C Typ C
Samostatné provedeni — DP2-AOU DP2-AOU
Rozhrani pro pocitac USB3.1 Gen2 USB 3.1 USB 3.1

*1 Analogové Cislicovy prevodnik. Skutecn

4 bitova hloubka kamery zavisi na pouzivaném softwaru. *2 Snimkova frekvence zavisi na stavu vaseho pocitace a/nebo softwaru.

DP23M *

SC180

LC35*

RozliSeni (megapixely)

6,4

18,0

3,5

Velikost a typ snimace

1/1,8 palce Monochromaticky CMOS se zadnim

1/2,3 palce Barevny CMOS

1/1,2 palce Barevny CMOS

osvitem
Velikost pixelu (pm) 2,4x2,4 1,25x1,25 2,64 x2,64
Doby expozice 0,013ms-25s 22 ps-1s 25ps-1,5s
Dynamicky rozsah™' 10bitovy 12bitovy 10bitovy
Snimkové frekvence Zivého zobrazeni*? | 60 a7 45 59a710,5 49az10

Filtr pro odfiltrovani IR

Rozméry (@ x V)

58 mm x 32 mm
(2.3 palce x 1,3 palce)

*s5

Hmotnost (priblizné)

3809 (13,4 unce)

188 g (6,6 unce)

339 (1,16 unce)

ReZim 3CMOS

Funkce LiveHDR

Adaptér kamery Typ C Typ C Typ C
Samostatné provedeni — — —
Rozhrani kamery USB 3.1 USB 3.0 USB 3.1

*1 Analogové Cislicovy prevodnik. Skute¢na bitové hloubka kamery zavisi na pouZivaném softwaru.

*2 Snimkova frekvence zavisi na stavu va$

eho pocitace a/nebo softwaru.

*3 Nutno pouzit verzi PRECiV v1.1 nebo vy3si.
*4 PRECiV v1.1: nutnd servisni aktualizace.

*5 Na rozdil od ostatnich kamer neni kamera LC35 cylindricka. Rozméry (H x § x V): 47 mm x 46 mm x 24 mm (1,9 x 1,7 x 1,2 palce).
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Objektivy UIS2

Univerzalni systém s korekci na nekone¢no

Optické parametry objektivu UIS2 pro primyslové a metalurgické aplikace.

Tloudtka _—
. Kremik cx g
Objektivy Zvetsent NA wD. kryciho Tiouitka | Rezisent
(mm) skla 12 (um)
() (mm)
. 50x 095 035 0 035
“ MPLAPON 100x 095 035 0 035
Rada MPLAPON MPLAPON100xO MPLAPON2 100x olej 145 0,1 0 - 0,23
Toto je fada plan-apochromatickych objektivipro  Jednd se o plan-apochromaticky objektiv VXPLELN 20x 06 3 0 . 0,56
pozorovani jasného pole s vysokou Urovni korekce s olejovou imerzi ** s numerickou aperturou 50x 08 3 0 . 042
chromatické aberace. U této rady jsme dosahli 1,45. Nabizi maximalni miru korekce 2 o 3 o 06
optickych parametrd (aberace vinoplochy) pFi chromatické aberace a vysokou rozliSovaci MXPLFLN-BD* X (55 61
Strehlové poméru™ 95 % nebo vétsim." schopnost. 50 08 3 0 042
s
Tato fada je také kompatibilni s diferencidlnim 1’222);@ g’gg 13657 — - i’?g
interferencnim kontrastem nebo jednoduchym o 015 200 _ 24
pozorovanim v polarizovaném sveétle. 0 030 0 P
MPLFLN * g : o '
20x 045 31 0 0,75
40x 0,75 063 0 045
Rada MXPLFLN(-8D) oo | 0% 0 0 057
Objektivy MXPLFLN pridévaji k fadé objektivii y y :
MPLFLN pro zobrazovani v episkopickém 2,5% 0,08 87 - 419
osvétleni hloubku, které dosahuji soucasnym 5 015 120 - 2,24
zlepsenim numerické apertury a pracovnf MPLFLN- 10x 0.30 65 = 112
vzdalenosti. finds 20x 045 30 0 0,75
50x 0,80 1,0 0 042
100x 0,90 1,0 0 037
150x 0,90 1,0 0 037
- 5% 0,15 120 - - 224
10x 025 65 — — 1,34
MPLFLN-BDP*® 20x 0,40 3,0 0 — 0,84
50x 0,75 1,0 0 — 045
100x 0,90 1,0 0 — 037
20x 025 25 - — 1,34
Rada MPLELN (oD) awew | R | o | e |0 | - | o
Tyto rovinné polo-apochromatické objektivy eliminuji ve vysoké mire chromatickou aberaci, coz je - - -
uzite¢né pro sSirokou $kalu mikroskopickych metod, jako je méreni svétlého pole, tmavého pole nebo 5% 013 225 - - 2,58
fluorescence, Nomarského DIC* nebo jednoduché pozorovani v polarizovaném svétle. Vechny 10x 025 21,0 — - 1,34
objektivy 50x a vy3si maji pracovni vzdalenost 1 mm, coz minimalizuje riziko kolize objektivu a vzorku. LMPLFLN 20x 040 120 0 - 084
ProtoZepoloha vystupni pupily objektivi 5x-150x je standardizovana, neni nutno pfi zméné zvétseni 50x 0,50 106 0 - 067
ménit polohu hranolu DIC. 100x 080 34 0 - 042
5x 0,13 15,0 — — 2,58
10x 0,25 10,0 — — 134
. LMPLFLN-BD™ 20x 0,40 12,0 0 — 084
4 50x 0,50 10,6 0 — 0,67
2 100x 0,80 33 0 — 0,42
5x 0,10 20,0 — 336
10x 0,25 10,6 — 134
MPLN"7 20x 0,40 13 0 0,84
Rada MPLFLN-BDP Rada SLMPLN e o o8 S - 0
Rovinna polo-apochromatickd polarizacni Tato rada achromat( s velmi dlouhou pracovni . - .
konstrukee zajistuje presnou kompenzaci koma vzdalenosti minimalizuje riziko kolize mezi 5x 010 12,0 - - 336
aberace. Diky minimalnimu zkreslent jsou tyto vzorkem a objektivem. Zajistuje také vysoce 10x 025 6,5 — - 134
cile idedIni volbou v fadé UIS2 pro DIC kontrastni obraz. MPLN-BD™7"10 20x 0,40 13 0 = 0,84
mikroskopii Nomarski. 50x 075 0,38 0 - 045
100x 0,90 0,21 0 — 0,37
20x 0,45 83-74 0-1,.2 0,75
_ - LCPLFLN-LCD 50x 0,70 3,0-2,2 0-1,.2 0,48
@ a Q . 100x 085 1,2-0.9 0-07 039
- 5x 01 23 — 6,71
@ LMPLN-IR 10x 03 18 - 224
20x
Skio: 8,38
Rada LMPLFLN (-BD) 7,63
Tato fada polo-apochromatickych objektivéi s dlouhou pracovni vzdalenosti nabizi vysokou droveri Kremik:
korekce chromatické aberace a je vhodna pro pozorovani vzork( s proménlivou vy3kou nebo 838-7,07
topografii, Protoze poloha vystupni pupily opjektivii 5x-100x je standardizovand, neni nutno pfi
zméné zvétseni ménit polohu hranolu DIC. Rada BD je urcena k pozorovani ve svétlém i tmavém poli. 50x
20x 0,45 Sklo: 0-1,2 0-1,2 1,49
LCPLN-IR” 50x 0,65 4,50-3,76 0-12 0-12 1,037
100x 0,85 Kremik: 0-0,7 0-1,0 0,79
4,50-4,20
100x
Sklo:
1,20-0,90
. Kremik:
Rada MPLN (-BD) 1,20-1,05

Objektivy Plan Apochromat s vynikajici rovinnostf die OFN 22. Rada BD je ur¢ena k pozorovani ve

svétlém i tmavém poli.

Rada LMPLN-IR, LCPLN-IR

Rada LCPLFLN-LCD
Tyto objektivy jsou uréeny k pozorovani Rada objektivd urcend pro blizkou
LCD panelt a jinych vzorkU se sklenénym infracervenou mikroskopii pro pozorovanf
Eodkladem. Korekéni krouzek umoZriuje vnitfni struktury kfemikovych wafer(. Rada
orekci aberace podle tloustky skla. LCPLN-IR ma korekeni krouzky pro aberaci
v zavislosti na tloustce kfemikového nebo
sklenéného substratu.

*1 Strehldv pomér: Pokud predpokladame, Ze pomér kondenzace svétla (intenzita ve stfedu) v obrazovém
poli idedlni aplanatické optické soustavy ¢ini 100 %, pak pomér kondenzace svétla v % ve skutecné optické
soustavé nazyvame Strehliv pomér. Cim vy33i je tato Ciselna hodnota, tim lepsi je kvalita optické soustavy.

*2 StrehlGv pomér je zarucen nasledujicimi podminkami.  Méfeni: Interferometr vinoplochy s prochazejicim
svétlem (internf zafizeni spole¢nosti Evident)  Teplota: Stupnice 23 + 1
* Méfend plocha: 97 % praméru zornice

*3 Predepsany olej: IMMOIL-F30CC
*4 Objektiv MPLFLN40X nenf kompatibilni s diferenciéinf interferencnf kontrastni mikroskopif.

*5 —: Plati pro zobrazovéni vzorkd s krycim sklem nebo bez néj
0 Plati pro zobrazovani vzorkd bez kryciho skla

*6 Rozlideni se urcuje se zcela otevienou aperturnf clonou.
*7 Omezeno na OFN 22. Beze shody s OFN 26.5.
*8 Analyzator a polarizator se doporucuje pouZivat s objektivem MPLFLN1,25x nebo 2,5x.
*9 BD: Objektivy pro svétlé pole/tmavé pole
*10 Pri pouZiti objektivli Fady MPLN-BD se zdroji svétla o vysoké intenzité

(jako napf: vybojky a xenonova svétla pro travé pole) miize dochazet k mirné vinétaci
*11 Pfi pouZiti 1100nm laseru.
*12 - Nenf k dispozici.
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Okulary UIS2

Univerzalni systém s korekci na nekone¢no

[ Technické parametry okuléru UIS2

Produkt FN D'a%:;e M”((rrrfm)e” Pozndmky
WHN10x 22 — 24 —

WHN10x-H 22 -8 - +5D 24 se Sroubovici
CROSS WHN10x 22 -8 - +5D — s kfizem, Sroubovice
WH15x 14 - 24 —

SWH10x-H 26,5 -8-+2 — se Sroubovici
MICRO SWH10x 26,5 -8-+2 — s mikrometrem, Sroubovice
CROSS-SWH10x 26,5 -8-+2 — s kfizem, Sroubovice

OoC-M

Mikrometrické m

v

rizky (¢ 24 mm)

Po vloZeni modelu OC-M do clony irisového pole okuldru WHN10x Ize zméfFit délku vzorku v zorném poli.V
zavislosti na vzorku jsou k dispozici rlizné typy.

Technické parametry OC-M

10/100 10 mm v 100 dilcich
Cross 10/100 10 mm ve 100 dilcich na nitkovém kfiZi
H5/5 5 mm v 5 dilcich v miizce
% H7/7 7 mm v 7 dilcich v mfiZce
H10/100 10 mm v 100 dilcich v mfizce

10/100 H10/100

Cross 10/100
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Opticka terminologie

1. Cislo pole (FN) a zorné pole

Cislo pole (FN) udava velikost membrany

okuldru v mm, kterd urcuje plochu obrazu vzorku.
Prdmér clony, ktery je skutecné vidét okularem,
nazyvame zorné pole (FOV) a ur€ujeme jej podle vzorce:

FN okuldru
FOV= 5 etgen objektivu (mm)

2. Pracovni vzdalenost (W.D.)

Vzdalenost mezi predni hranou objektivu a povrchem vzorku
(v pFipadé objektivu s krycim sklem jde o povrch kryciho skla),
kdyz je vzorek zaostreny.

3. Parfokalni vzdalenost

Vzdalenost mezi montézni rovinou objektivu
a vzorkem. U objektiv( UIS2 ¢ini konstrukéni parfokalni
vzdalenost 45 mm.

Working Distance and Parfocal Distance Objective

mounting position

—

Parfocal distance

Working distance (W.D.)

=

Focus plane

Parfokalni vzdalenost zafizeni fady LCPLFLN-LCD a LCPLN-IR
se méni podle tlouStky krycich skel nebo kfemikovych
filmG na vzorcich.

4. Vztah mezi ohniskovou vzdalenosti objektivu
a zvétSenim

Uvedené zvétseni objektivli UIS2 jsou hodnoty pfi ohniskové
vzdalenosti tubusu objektivu 180 mm.

M ohniskova vzdalenost tubusu objektivu
(ob) f

M (o ZvétSeni objektivu
f: Ohniskova vzdalenost objektivu

5. Celkové zvétSeni

5.1 Pozorovani okularem (binokularni pozorovani)

M (bin) = M (ob) X M (oc)

M ino: Celkové zvtSeni pFi binokuldrnim pozorovani
M oy ZvétSeni objektivu
M (o ZvétSeni okularu

5.2 Pozorovani na video monitoru
Celkové zvétSeni video monitoru
M (monitor) = M (ob) X M (adaptér kamery) X
zvétSeni monitoru*

M (moniton: Celkové zvétSeni na monitoru
M oby: ZvétSeni objektivu
(adaptér kamery): ZVESeni prdmétu adaptéru kamery
(viz tabulku 1)
* ZvétSeni monitoru” viz tabulku 3

Zorné pole pro pozorovani na monitoru

Zorné pole pozorovani _ rozméry zobrazovaciho zafizeni*

na mOnitOrU M (ob) X M (adaptér kamery)

M (ob): Zvét3eni objektivu

M (adaptér kamery): ZvétSeni primétu adaptéru kamery
vietné foto-okularu (zvétSeni primétu
viz tabulku 1)

* Rozméry zobrazovaciho zarizeni viz tabulku 2



Tabulka 1 Adaptér kamery a zvétSeni primétu

Adaptér video kamery (priimétovy objektiv)

Zvétseni primétu

U-TVIXC 1x
U-TV1X + adaptéry pro nasazeni kamery 1x
U-TV0.63XC 0,63x
U-TV0.5XC 0,5x
U-TV0.35XC 0,35x

Tabulka 2 Velikost zobrazovaciho zafizeni

Formét kamery UhlopFitka HorizontaIni VertikaIni
1/3 palce 6,0 mm 4,8 mm 3,6 mm
1/2 palce 8,0 mm 6,4 mm 4,8 mm
2/3 palce 11,0 mm 8,8 mm 6,6 mm

VySe uvedend tabulka plati pro standardni velikosti zobrazovacich zarizeni.Pro presny
vypocet zkontrolujte velikost zarizeni.

Tabulka 3 Velikost zobrazovaciho zafizeni a zvétSeni monitoru

B Velikost monitoru (Ghlopficka)
Format kamery - - " N "
10 palct 15 palcd 17 palcd 19 palct 21 palcl
1/3 palce 42,3x 63,5x 72,0x 80,4x 88,9x
1/2 palce 31,8x 47,6x 54,0x 60,3x 66,7x
2/3 palce 23,1x 34,6x 39,3x 43,9x 48,5x
Priklad

Jaké je celkové zvétSeni monitoru pri pouziti objektivu
50x, adaptéru U-TV0,5XC, 2/3palcové kamery
a 21palcového monitoru?

¢ Celkové zvétSeni na monitoru:

Moty = 50%, M aasptér video kamery) j€ 0,5x (z tabulky 1) a zvétSeni
monitoru je 48,5x (z tabulky 3).

M(pozorovém’na monitoru) = M(ob) X M(adaptér video kamery) X ZVétgem’
monitoru =50 x 0,5 x 48,5 = 1213x

e Zorné pole pro pozorovani (horizontalni strana):

M osy = 50X, M aaapter kamery) j€ 0,5x (z tabulky 1) a horizontalni
strana 2/3palcového zobrazovaciho zafizeni je 8,8 mm

(z tabulky 2).

Zorné pole

_ rozméry zobrazovaciho zafizeni
pro pozorovani

M (ob) x M (adaptér video kamery)

= 88(mm) =352pm
50x%0,5

6. Numericka apertura (NA)

Numericka apertura je klicovym faktorem

ovliviiujicim parametry

objektivu (rozliSovaci schopnost, hloubku ostrosti a jas).

Hodnota NA se urcuje podle nasledujiciho vzorce:
NA=nxsinf

n=Index lomu média mezi vzorkem a objektivy. (Air: n=1,
olej: n=1,515)

8: Uhel, ktery svira optick4 osa a lom svétla nejdale
od stfedu cocky.

Opticka terminologie

Jas zorného pole (B) mikroskopu se urcuje podle nasledujiciho
vzorce v zavislosti na zvétseni objektivu (M). Cim vy3si je
hodnota NA a ¢im menSi je zvétSeni objektivu, tim vétsi je jas,
ktery roste s druhou mocninou.

NA 2

Bo—"—

M2

Numerical Aperture
|

[y

6

>
-l
-

Specimen
— surface

7. RozliSovaci schopnost

RozliSovaci schopnost objektivu se méfi schopnosti rozlisit dvé
¢ary nebo body v objektu. Cim vy33i je rozliSovaci schopnost,
tim mensSi je minimalni vzdalenost mezi dvéma €arami nebo
body, které Ize je3té rozlisit. Cim vy33i je hodnota NA, tim
vy3Si je rozliSovaci schopnost.

Vzorec pro rozliSovaci schopnost
Pro stanoveni rozliSeni se obvykle pouziva nasledujici vzorec.

€=0,61x

N;\\ (Reyleightiv vzorec)
\: PouZita vinova délka nebo zareni

(pro viditelné svétlo se pouZiva A=0,55 pm)
NA: NA objektivu

Priklad
MPLFLN100 x (NA=0,90), A=0,55 pm

A = 03355 = 0,3355
NA NA 0,90

€=0,61x =0,37 ym

8. Hloubka ostrosti mikroskopu

Hloubkou ostrosti se rozumi hloubka vrstvy vzorku, kterd je
zobrazena ostre, i kdyZ se pfi pozorovani a snimani roviny
vzorku mikroskopem méni vzdalenost mezi objektivem

a rovinou vzorku. Vzhledem k tomu, Ze lidské oko ma rdiznou
schopnost ostfeni, vnima kazdy ¢lovék hloubku ostrosti jinak.
V soucasné dobé se bézné pouziva BerekQv vzorec, jehoz
vysledkem je hloubka ostrosti, ktera se v mnoha pfipadech
shoduje s experimentalné ziskanou hodnotou.
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Vzorec pro hloubku ostrosti
Vizualni pozorovani (Berekdv vzorec)

w x 250,000 + A
NA x M 2 (NA)?
DOF: Hloubka ostrosti

+ DOF = n( ) (Hm)

w: RozliSovaci schopnost oci 0,0014
(zorny Uhel 5 dhlovych minut)

M: Celkové zvétSeni
(zvétSeni objektivu x zvétSeni okularu)

350 + 0,275
NA x M NA 2

>+ DOF=n( )(A = 0,55 pm)

To znamen4, Ze hloubka ostrosti klesa s rostouci
numerickou aperturou.

Priklad
S modelem MPLFLN100x (NA=0,90), WHN10x:

350 + 0,275
090x1000 0,81

+DOF=1x( )=0,39+0,34=0,73 pm

Kamera
V pripadé fotoaparatu se hloubka ostrosti lisi podle poctu
pixeld fotoaparatu, optického zvétseni a clonového Cisla.
ViySe uvedeny vzorec slouZi pouze jako hrubé voditko.

9. Aberace - odchylka

Rozdil mezi idedInim a skutecnym obrazem, ktery prochazi
optickou soustavou, se nazyva aberace.

9.1 PoZadavky na idedlni tvorbu obrazu
Pro vytvoreni obrazu bez aberace neboli idealniho obrazu
musi byt spInény nasleduijici tfi poZzadavky.
(i) VSechny svételné paprsky vychazejici z jednoho
bodu a prochazejici optickou soustavou se sbihaji
v jediném bodé.
(ii) Obrazové body odpovidajici boddim objektu v téze
roviné kolmé na optickou osu leZi ve stejné roviné.
(iii) Mezi ploSnym tvarem objektu a ploSnym tvarem
obrazu, které leZi ve stejné roviné kolmé na optickou
osu, plati vztah podobnosti.
V readlném optickém systému je ale velmi obtizné striktné
splnit pozadavky na idealni tvorbu obrazu, a vysledkem jsou
aberace, které funkci tvorby obrazu naru3uji.

9.2 Klasifikace aberaci

Aberace, které naruSuji vykon pfi tvorbé obrazu, klasifikujeme

podle obrazku 9-2.

Seidelova aberace = ,roztazeni obrazu bodu” + ,zakfiveni

roviny obrazu” +,deformace”.

Seidel's
aberration

]

Chromatic

Figure 9-2 Classification of Aberrations
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Field curvature
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Figure 9-1
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Object Image plane

aberration

(7) Chromatic aberration
of magnification

Typy (1) az (3) odpovidaji ,roztaZeni obrazu bodu”, které

je vrozporu s pozadavkem (i) na ideaIni tvorbu obrazu na
obrazku 9-1. Typ (4) odpovida ,zakfiveni roviny obrazu”,
které je v rozporu s pozadavkem (ii) na obrazku 9-1. Typ (5)
odpovida , deformaci”, ktera je v rozporu s pozadavkem (iii)
na obrazku 9-1.

Typy (6) a (7) odpovidaji ,,barevnému rozmazani” obrazu
zpUsobenému vlastnostmi sklenénych material pouzitych
v optické soustavé.

~RoztaZeni obrazu bodu” Ize téZ popsat jako aberaci
vinoplochy, kdy je svétlo povazovéano za vinéni a v Gvahu se
bere faze a vliv difrakce.

(1) Sféricka aberace

Kdyz svételné paprsky vychazejici z bodu v ose objektu
vstupuji do objektivu, jsou paprsky s vétsi numerickou
aperturou (NA) vystaveny vétSimu lomu a protinaji optickou
osu v mistech s vétsi odchylkou od idealni polohy tvorby
obrazu. Aberaci zplsobenou rdiznymi polohami obrazu

v dUsledku rozdil( v hodnoté NA axidlnich svételnych paprskd
nazyvame sférickou aberaci. Sféricka aberace je Gmérna treti
mocniné hodnoty NA.

Figure 9-3 Spherical Aberration

Specimen Aplanatic

tube lens

Objective with
spherical aberration

Image plane




Rikd se, Ze objektivy s v&tsi hodnotou NA maiji lepsi rozlident,
ale horsi sférickou aberaci. Pokrocilé konstrukéni a vyrobni
techniky ndm umoznily dosahnout skvélych optickych
parametr(l i pfi velké numerické aperture.

(2) Koma aberace

Sféricka aberace je sice kompenzovana tak, aby byla
minimalni, nicméné existuji pfipady, kdy svételné paprsky
vychazejici z bodu mimo osu objektu nejsou koncentrovany
do jediného bodu v obrazové roving, nybrz vytvareji
asymetrickou rozmazanou ploSku podobnou stopé komety.
Tento jev nazyvame koma aberace.

Figure 9-4 Coma Aberration and Spot Shape
on the Image Plane

Specimen Aplanatic
tube lens

Objective with
coma aberration

Image plane

(3) Astigmatizmus

I kdy? je objektiv kompenzovan na sférickou aberaci a koma
aberaci, existuji pfipady, kdy obraz bodu objektu mimo

osu neni zaostren do jednoho bodu, nybrz je rozdélen na
obraz soustfedné a radidlni Usecky. Tento jev nazyvame
astigmatizmus. V pfipadé astigmatizmu se obraz bodu pred
a za mistem zaostreni vertikalné a horizontalné rozostfi.

Figure 9-5 Astigmatism and Change in Spot
Shape in Different Focus Positions

Opticka terminologie

(4) Zakriveni pole

Obrazova rovina objektu v roviné kolmé na optickou osu neni
vzdy rovinou kolmou na optickou osu; obecné fe€eno se stava
zakfivenou rovinou. Tento jen nazyvame ,zakfiveni pole”.

V pripadé zakfiveni zorného pole dojde k vétSimu posuvu
obrazu v mistech blize k okrajim zorného pole. Proto

pfi zaostFeni stfedu obrazu dochazi k rozmazani v jeho
okrajovych ¢astech. Aby byl cely obraz dobre zaostfeny vcetné
okrajd, je u tohoto typu nutnad kompenzace.

(5) Zkresleni

Pokud neexistuje vztah podobnosti mezi rovinnym tvarem
na objektu a tvarem v roviné obrazu, nazyvame tento

jev ,zkresleni”. V pfipadé zkresleni se zobrazi ¢tvercovy
obraz soudkovitého nebo polStarkového tvaru, jak
ukazuje obrazek 9-6.

Figure 9-6 Distortion

(a) Barrel shape  (a) Pin-cushion
type type

Opticka soustava mikroskopu ma urité zkresleni. V pripadé
zkresleni maze dochazet k chybnym vysledklm pri méreni
tvaru. Pokud je mikroskop pouZit k pfesnému méreni,
vénujte této aberaci velkou pozornost (mdZete napfiklad
pristroj vybavit funkci kompenzace aberace).

(6) Chromatickéa aberace

Skla pouzivana pro optické systémy maji riizny index

lomu v zavislosti na vinové délce. Vysledkem jsou rozdily

v ohniskové vzdalenosti mezi rznymi vinovymi délkami a pfi
tvorbé obrazu dochézi k polohovym posuniim. Tento jev
nazyvame chromaticka aberace a Ize jej rozlozit na axialni
posun v optické ose, tzv. axialni chromatickou aberaci (nebo
lateralni chromatickou aberaci), a posun v roviné obrazu, tzv.
chromatickou aberaci velikosti.

Je pouZita celd fada specidlnich skel, napf. pro apochroméaty
(naSe objektivy MPlanApo), pro eliminaci chromatické
aberaci v Sirokém rozsahu od fialového svétla (g-zareni

s vinovou délkou 435 nm) aZ po Cervené (c-zafeni s vinovou
délkou 656 nm).
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9.3 Aberace vinoplochy

Aberace se po mnoho let vyuzivaly v

geometrické optice, ktera pracuje se svétlem jako s paprsky.
Optické systémy mikroskopU se ¢asto pouzivaji k pozorovani
velmi malych vzork( na Grovni vinovych délek, nékdy

i s pouZitim vinové optiky, kterd pracuje se svétlem jako

s vinénim a zpracovava fazové informace se zohlednénim
difrakce. V takovém pfipadé se k vyhodnoceni pouziva
aberace vinoplochy.

Jak vidime niZe, pokud opticka soustava mikroskopu spliuje
pozadavky na idedlni zobrazeni, potom je sféricka vinoplocha
(sférické viny) vychazejici z jednoho bodu na objektu (vzorku)
pri priichodu idedInim objektivem prevadéna na rovinné
viny. Rovinné viny jsou pomoci idealniho tubusu objektivu
prevadény na sférické a koncentrovany do jediného bodu.
VInoplochu téchto vin nazyvame idealni vinoplochou.

Figure 9-7 Ideal Microscope Optical System

Specimen Ideal Ideal Image plane
objective tube lens
lens
Spherical Plane Spherical
wave wave wave

StrehlGv pomér 9.4

KdyZ pozorujeme bodovy zdroj svétla optickou soustavou
bez aberace a s aberaci, potom prvni z nich koncentruje
paprsky pfi tvorbé obrazu do jediného ohniska. Naopak -

v druhém pripadé se nepodafi vytvofit ohnisko a misto toho
dojde k rozptylu v distribuci intenzity obrazu bodu (tento jev
nazyvame bodovy rozptyl). Pfesny vzhled takového obrazu
bodu (tj. rozptyl bodu) ukazuje obr. 9-9.

Figure 9-9 Appearance of Condensed Light in
the Image Plane (Point Spread)

Aberration-free optical system Aberrated optical system

Na zakladé obrazku pro (1) sférickou aberaci je niZze popsano
chovani vinoplochy v optickém systému, ktery ma aberaci.

Figure 9-8 lllustration of Wavefront Aberration

Actual
wavefront

/ wavécfjr%arlwlt
(HlESS
(

Objective with
spherical aberration

Specimen

Rozdil (mira nesouladu) mezi idedlni vinoplochou a skutecnou
vinoplochou (zobrazenou vySe) se nazyva aberace vinoplochy.

Podil svétla koncentrovaného v roviné obrazu

(intenzita svétla koncentrovaného na Airyho disk) u optické
soustavy bez aberace je 100 %; podil svétla koncentrovaného
aberovanou optickou soustavou se nazyva Strehldv pomér.
Po vyneseni do grafu vykazuje StrehlGv pomér Spicky
intenzity, jak ukazuje obr. 9-10. Cim vy33i je hodnota SR,

tim vice se opticka soustava bliZi stavu bez aberace.

Figure 9-10 Strehl Ratio (SR)

Intensity

Aberration-free ———
optical system

100%
Aberrated
optical system SR

Image plane

StrehlGv pomér 80 % obvykle nazyvame difrakéni mez;
objektiv s nizSim pomérem nema dostatecny vykon, aby jej
bylo moZné pouZzit jako objektiv. Pomé&r pres 95 % znamena,
Ze vykon objektivu pfi béZném pozorovani je srovnatelny

s vykonem aplanatického objektivu (s korekci na sférické
aberace a komu).

Poznamka: Pro posouzeni optické vykonnosti se pouziva
laserovy interferometr, takZe vyhodnoceni se provadi na jedné
vinové délce. Pokud neni uvedeno jinak, je jako zaklad pouzito
méreni Strehlova poméru (544 nm).
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